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(57)【要約】
【課題】履物を着用している間に起こる身体運動に関す
るデータまたは情報を測定し、検出し、受信し、および
／または送信することのできる履物システムの提供。
【解決手段】ユーザ１０４が動くと、履物１００に装着
されるかまた含まれるモジュール１０２に備えられた装
置は、運動または履物の使用に関連した一つまたは複数
の物理的または生理学的特性(例えば、類似の速度およ
び距離情報、ＧＰＳ情報、脈搏数、心拍数等)を測定し
、あるいは他の所望の機能を実行する。後の使用や分析
のために、データは、メモリに格納されることができ、
および／または例えばモジュールあるいは履物の一部と
して任意に含まれる無線送信装置１０６を介してユーザ
または他のものへ送信されることができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モジュール固定要素を有する履物品と；
　モジュール固定要素に取り外し可能に係合され、電子装置を含むモジュールと；
　モジュールがモジュール固定要素に係合されているかを検出し、モジュールがモジュー
ル固定要素に係合されていると判断した場合、モジュールまたはモジュールの少なくとも
第一の機能を作動させる作動システムとを
含む、履物システム。
【請求項２】
　作動システムの少なくとも第一の部分が、履物品に含まれる、請求項1記載の履物シス
テム。
【請求項３】
　作動システムの第一の部分が履物品に含まれ、作動システムの第二の部分がモジュール
に含まれる、請求項1記載の履物システム。
【請求項４】
　作動システムが、磁気センサシステムを含む、請求項1記載の履物システム。
【請求項５】
　磁気センサシステムの第一の部分が履物品に含まれ、磁気センサシステムの第二の部分
がモジュールに含まれる、請求項4記載の履物システム。
【請求項６】
　磁気センサシステムの第一の部分が、モジュール固定要素に隣接している位置で履物品
に係合された磁石を含む、請求項5記載の履物システム。
【請求項７】
　モジュール固定要素が、モジュールを取り外し可能に受けるために、履物品上またはそ
の中に画定されたポケットを含む、請求項1記載の履物システム。
【請求項８】
　モジュールが、ワイヤレス様式で入力データを受信するためのデータ入力システムを含
む、請求項1記載の履物システム。
【請求項９】
　データ入力システムが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力データを受信す
る、請求項8記載の履物システム。
【請求項１０】
　モジュールが、少なくとも速度または距離情報を検出する、請求項1記載の履物システ
ム。
【請求項１１】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項1記載の履物システム。
【請求項１２】
　モジュール固定要素を有する履物品と；
　モジュール固定要素に取り外し可能に係合され、電子装置を含むモジュールと；
　モジュールが第一の方向でモジュール固定要素に係合されているかを検出し、モジュー
ルが第一の方向でモジュール固定要素に係合されている場合、モジュールまたはモジュー
ルの少なくとも第一の機能を作動させる作動システムとを
含む、履物システム。
【請求項１３】
　作動システムが、モジュールが第二の方向でモジュール固定要素に係合されているかを
さらに検出し、モジュールが第二の方向でモジュール固定要素に係合されている場合、モ
ジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能が作動停止される、請求項12記載の履
物システム。
【請求項１４】
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　モジュールまたはモジュールの第一の機能が、モジュールが第一の方向でモジュール固
定要素に係合されていない場合に、作動されないまたは作動停止される、請求項12記載の
履物システム。
【請求項１５】
　作動システムの少なくとも第一の部分が、履物品に含まれる、請求項12記載の履物シス
テム。
【請求項１６】
　作動システムの第一の部分が履物品に含まれ、作動システムの第二の部分がモジュール
に含まれる、請求項12記載の履物システム。
【請求項１７】
　作動システムが、磁気センサシステムを含む、請求項12記載の履物システム。
【請求項１８】
　磁気センサシステムの第一の部分が履物品に含まれ、磁気センサシステムの第二の部分
がモジュールに含まれる、請求項17記載の履物システム。
【請求項１９】
　磁気センサシステムの第一の部分が、モジュール固定要素に隣接している位置で履物品
に係合された磁石を含む、請求項18記載の履物システム。
【請求項２０】
　モジュール固定要素が、モジュールを取り外し可能に受けるために、履物品上またはそ
の中に画定されたポケットを含む、請求項12記載の履物システム。
【請求項２１】
　モジュールが、ワイヤレス様式で入力データを受信するためのデータ入力システムを含
む、請求項12記載の履物システム。
【請求項２２】
　データ入力システムが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力データを受信す
る、請求項21記載の履物システム。
【請求項２３】
　モジュールが、少なくとも速度または距離情報を検出する、請求項12記載の履物システ
ム。
【請求項２４】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項12記載の履物システム。
【請求項２５】
　モジュール固定要素を有する履物品と；
　モジュール固定要素に取り外し可能に係合され、電子装置を含むモジュールと；
　履物品およびモジュールが互いとの動作について認可されるかを判断する認証システム
とを
含む、履物システム。
【請求項２６】
　認証システムが、モジュールが第一の方向でモジュール固定要素に係合されているかを
検出する、請求項25記載の履物システム。
【請求項２７】
　モジュールが第一の方向でモジュール固定要素に係合されている場合、認証システムが
、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能の作動をさらに可能にする、請求
項26記載の履物システム。
【請求項２８】
　モジュールが第一の方向以外の任意の方向でモジュール固定要素に係合されている場合
、認証システムが、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能の作動を可能に
しない、請求項26記載の履物システム。
【請求項２９】
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　履物品との動作についてモジュールが認可されないと判断された場合、認証システムが
、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能の作動を可能にしない、請求項25
記載の履物システム。
【請求項３０】
　認証システムの少なくとも第一の部分が履物品に含まれる、請求項25記載の履物システ
ム。
【請求項３１】
　認証システムの第一の部分が履物品に含まれ、認証システムの第二の部分がモジュール
に含まれる、請求項25記載の履物システム。
【請求項３２】
　認証システムが、磁気センサシステムを含む、請求項25記載の履物システム。
【請求項３３】
　磁気センサシステムの第一の部分が履物品に含まれ、磁気センサシステムの第二の部分
がモジュールに含まれる、請求項32記載の履物システム。
【請求項３４】
　モジュール固定要素が、モジュールを取り外し可能に受けるために、履物品上またはそ
の中に画定されたポケットを含む、請求項25記載の履物システム。
【請求項３５】
　認証システムが、少なくとも第一の磁石を含む、請求項25記載の履物システム。
【請求項３６】
　少なくとも部分的に、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、第一の磁石が
所定の様式で方向付けられているかを検出することによって、認証システムが、履物品お
よびモジュールが互いとの動作について認可されるかを検出する、請求項35記載の履物シ
ステム。
【請求項３７】
　少なくとも部分的に、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、第一の磁石が
所定の位置で方向付けられているかを検出することによって、認証システムが、履物品お
よびモジュールが互いとの動作について認可されるかを検出する、請求項35記載の履物シ
ステム。
【請求項３８】
　少なくとも部分的に、第一の磁石が少なくともしきい値の強度を有するか検出すること
によって、認証システムが、履物品およびモジュールが互いとの動作について認可される
かを検出する、請求項35記載の履物システム。
【請求項３９】
　少なくとも部分的に、第一の磁石が所定の範囲内の強度を有するかを検出することによ
って、認証システムが、履物品およびモジュールが互いとの動作について認可されるかを
検出する、請求項35記載の履物システム。
【請求項４０】
　認証システムが、複数の磁石を含む、請求項25記載の履物システム。
【請求項４１】
　少なくとも部分的に、複数の磁石が所定の様式で配設されているかを検出することによ
って、認証システムが、履物品およびモジュールが互いとの動作について認可されるかを
検出する、請求項40記載の履物システム。
【請求項４２】
　少なくとも部分的に、複数の磁石が互いに対して、またはモジュールに対して、所定の
位置に配設されているかを検出することによって、認証システムが、履物品およびモジュ
ールが互いとの動作について認可されるかを検出する、請求項40記載の履物システム。
【請求項４３】
　少なくとも部分的に、複数の磁石が少なくとも所定の合成磁界強度を発生させるかを検
出することによって、認証システムが、履物品およびモジュールが互いとの動作について
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認可されるかを検出する、請求項40記載の履物システム。
【請求項４４】
　少なくとも部分的に、複数の磁石が所定の範囲内の合成磁界強度を発生させるかを検出
することによって、認証システムが、履物品およびモジュールが互いとの動作について認
可されるかを検出する、請求項40記載の履物システム。
【請求項４５】
　モジュールが、ワイヤレス様式で入力データを受信するためのデータ入力システムを含
む、請求項25記載の履物システム。
【請求項４６】
　データ入力システムが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力データを受信す
る、請求項45記載の履物システム。
【請求項４７】
　モジュールが、少なくとも速度または距離情報を検出する、請求項25記載の履物システ
ム。
【請求項４８】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項25記載の履物システム。
【請求項４９】
　上部部材と；
　上部部材に係合された靴底部材と；
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、電子装置を含むモジュールを取り
外し可能に係合するための構造を含む第一モジュール固定要素と；
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、第一のモジュール固定要素に存在
するモジュールが、モジュールで検知可能な変化を引き起こす場合、モジュールと相互作
用する第一の相互作用システムとを
含む、履物品。
【請求項５０】
　第一の相互作用システムの少なくとも第一の部分が、上部部材に含まれる、請求項49記
載の履物品。
【請求項５１】
　第一の相互作用システムの少なくとも第一の部分が、靴底部材に含まれる、請求項49記
載の履物品。
【請求項５２】
　第一の相互作用システムの少なくとも一部分が、少なくとも履物品が使用されている場
合に、モジュール固定要素に隣接して配置される、請求項49記載の履物品。
【請求項５３】
　第一のモジュール固定要素が、モジュールを受けるためのポケット部材を含み、ポケッ
ト部材が、上部部材上またはその中に少なくとも部分的に画定される、請求項49記載の履
物品。
【請求項５４】
　第一のモジュール固定要素が、モジュールを受けるためのポケット部材を含み、ポケッ
ト部材が、靴底部材上またはその中に少なくとも部分的に画定される、請求項49記載の履
物品。
【請求項５５】
　第一の相互作用システムが、第一のモジュール固定要素に隣接している上部部材または
靴底部材の少なくとも一つに係合された第一の磁石を含む、請求項49記載の履物品。
【請求項５６】
　第一の相互作用システムが、第一のモジュール固定要素に隣接している上部部材または
靴底部材の少なくとも一つに係合された第一の磁石、および第一のモジュール固定要素に
隣接している上部部材または靴底部材の少なくとも一つに係合された第二の磁石を少なく
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とも含む、請求項49記載の履物品。
【請求項５７】
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、第一のモジュール固定要素から独
立して、かつ電子装置を含むモジュールを、取り外し可能に係合するための構造を含む第
二のモジュール固定要素を
さらに含む、請求項49記載の履物品。
【請求項５８】
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、モジュールが第二のモジュール固
定要素に存在し、モジュールで検知できる変化を引き起こす場合、モジュールと相互作用
する第二の相互作用システムを
さらに含む、請求項57記載の履物品。
【請求項５９】
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、第一および第二のモジュール固定
要素から独立し、かつ電子装置を含むモジュールを取り外し可能に係合するための構造を
含む第三のモジュール固定要素と；
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、モジュールが第三のモジュール固
定要素に存在し、モジュールで検知できる変化を引き起こす場合、モジュールと相互作用
する第三相互作用システムとを
さらに含む、請求項58記載の履物品。
【請求項６０】
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、第一および第二のモジュール固定
要素から独立し、かつ電子装置を含むモジュールを取り外し可能に係合する構造を含む第
三のモジュール固定要素を
さらに含む、請求項57記載の履物品。
【請求項６１】
　モジュール固定要素を含む履物品と；
　少なくとも一部分が履物品に含まれるモジュール作動システムと；
　モジュール固定要素に取り外し可能に係合され、電子装置を含むモジュールであって、
モジュール作動システムとモジュールとの間の相互作用が、モジュールにデータ処理アル
ゴリズム選択情報を提供するモジュールとを
含む、履物システム。
【請求項６２】
　モジュール作動システムとモジュールとの間の相互作用が、モジュールが係合されてい
る履物のタイプを示し、モジュールが、相互作用に応じて、示された履物のタイプに関連
したデータ処理アルゴリズムを開始する、請求項61記載の履物システム。
【請求項６３】
　モジュール作動システムが磁石を含み、モジュールが磁気センサを含む、請求項62記載
の履物システム。
【請求項６４】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定された磁石の強度に基
づいて示される、請求項63記載の履物システム。
【請求項６５】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の方向に基づいて示さ
れる、請求項63記載の履物システム。
【請求項６６】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の位置に基づいて示さ
れる、請求項63記載の履物システム。
【請求項６７】
　モジュール作動システムが複数の磁石を含み、モジュールが少なくとも一つの磁気セン
サを含む、請求項62記載の履物システム。
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【請求項６８】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定された磁石の合成強度
に基づいて示される、請求項67記載の履物システム。
【請求項６９】
　モジュール作動システムとモジュールとの間の相互作用が、モジュールが係合される履
物品上の位置を示し、モジュールが、相互作用に応じて、示された位置に関連したデータ
処理アルゴリズムを開始する、請求項61記載の履物システム。
【請求項７０】
　モジュール作動システムが磁石を含み、モジュールが磁気センサを含む、請求項69記載
の履物システム。
【請求項７１】
　履物品上の位置が、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定された磁石の強度に
基づいて示される、請求項70記載の履物システム。
【請求項７２】
　履物品上の位置が、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の方向に基づいて示
される、請求項70記載の履物システム。
【請求項７３】
　履物品上の位置が、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の位置に基づいて示
される、請求項70記載の履物システム。
【請求項７４】
　モジュール作動システムが複数の磁石を含み、モジュールが少なくとも一つの磁気セン
サを含む、請求項69記載の履物システム。
【請求項７５】
　履物品上の位置が、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定された磁石の合成強
度に基づいて示される、請求項74記載の履物システム。
【請求項７６】
　履物品が、複数のモジュール固定要素を含み、モジュール作動システムとモジュールと
の間の相互作用が、モジュールが係合される複数のモジュール固定要素のうち特定のモジ
ュール固定要素を示し、モジュールが、相互作用に応じて、示された特定のモジュール固
定要素に関連したデータ処理アルゴリズムを開始する、請求項61記載の履物システム。
【請求項７７】
　モジュール固定要素それぞれが、独立したモジュール作動システム部分を含む、請求項
76記載の履物システム。
【請求項７８】
　独立したモジュール作動システム部分それぞれが磁石を含み、モジュールが磁気センサ
を含む、請求項77記載の履物システム。
【請求項７９】
　モジュールが特定のモジュール固定要素に係合されている場合、モジュールが係合され
ている特定のモジュール固定要素が、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定され
た磁石の強度に基づいて示される、請求項78記載の履物システム。
【請求項８０】
　モジュールが特定のモジュール固定要素に係合されている場合、モジュールが係合され
ている特定のモジュール固定要素が、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の方
向に基づいて示される、請求項78記載の履物システム。
【請求項８１】
　モジュールが特定のモジュール固定要素に係合されている場合、モジュールが係合され
ている特定のモジュール固定要素が、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の位
置に基づいて示される、請求項78記載の履物システム。
【請求項８２】
　モジュール固定要素が、モジュールを受けるためのポケットを含む、請求項61記載の履
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物システム。
【請求項８３】
　モジュールが、ワイヤレス様式で入力データを受信するためのデータ入力システムを含
む、請求項61記載の履物システム。
【請求項８４】
　データ入力システムが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力データを受信す
る、請求項83記載の履物システム。
【請求項８５】
　モジュールが、少なくとも速度または距離情報を検出する、請求項61記載の履物システ
ム。
【請求項８６】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項61記載の履物システム。
【請求項８７】
　ハウジングと；
　運動能力に関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を示す情報を検出する
ために、少なくとも部分的にハウジング内またはその上に備えられた検出要素と；
　ワイヤレス様式で入力データを受信するために少なくとも部分的にハウジング内または
その上に備えられ、少なくとも、検出要素が運動能力と関連した物理的または生理学的特
性を検出していない場合、入力データを受信することができるデータ入力システムとを
含む、物理的または生理学的能力監視システム。
【請求項８８】
　ハウジングが係合される履物品を
さらに含む、請求項87記載の物理的または生理学的能力監視システム。
【請求項８９】
　データ入力システムが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力データを受信す
る、請求項88記載の物理的または生理学的能力監視システム。
【請求項９０】
　少なくとも一部分で、履物品に係合されている、検出要素を作動させるかまたは作動を
可能にする作動システムを
さらに含む、請求項88記載の物理的または生理学的能力監視システム。
【請求項９１】
　少なくとも一部分で、履物品に係合され、履物品および検出要素が互いとの使用につい
て認可されているかを検出する認証システムを
さらに含む、請求項88記載の物理的または生理学的能力監視システム。
【請求項９２】
　ハウジングが、履物品に取り外し可能に係合される、請求項88記載の物理的または生理
学的能力監視システム。
【請求項９３】
　ハウジングが履物品に係合されている間、データがデータ入力システムに入力される、
請求項88記載の物理的または生理学的能力監視システム。
【請求項９４】
　データ入力システムが、少なくとも一部分で、磁気パルスを介して入力データを受信す
る、請求項87記載の物理的または生理学的能力監視システム。
【請求項９５】
　履物品中またはその上に備えられたモジュール固定要素に電子モジュールを係合する工
程であって、モジュールが電子装置を含む工程；および
　係合する工程に応じてモジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を自動的に
作動させる工程
を含む、電子モジュールを作動させる方法。
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【請求項９６】
　履物品が、モジュールまたはモジュールの第一の機能を作動させるために、作動システ
ムの少なくとも第一の部分を含む、請求項95記載の方法。
【請求項９７】
　モジュールが、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を作動させるため
に、作動システムの少なくとも第一の部分を含む、請求項95記載の方法。
【請求項９８】
　作動させる工程が、磁気センサシステムからの出力に応じて行われる、請求項95記載の
方法。
【請求項９９】
　磁気センサシステムの第一の部分が履物品に含まれ、磁気センサシステムの第二の部分
がモジュールに含まれる、請求項98記載の方法。
【請求項１００】
　磁気センサシステムの第一の部分が、モジュール固定要素に隣接している位置で履物品
に係合された磁石を含む、請求項99記載の方法。
【請求項１０１】
　モジュールがモジュール固定要素に係合されている間、モジュールにデータを入力する
工程
をさらに含む、請求項95記載の方法。
【請求項１０２】
　データがワイヤレス様式で入力される、請求項101記載の方法。
【請求項１０３】
　データが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力される、請求項102記載の方
法。
【請求項１０４】
　モジュール固定要素からモジュールを外す工程
をさらに含む、請求項95記載の方法。
【請求項１０５】
　外す工程が、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を自動的に作動停止
させる、請求項104記載の方法。
【請求項１０６】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項95記載の方法。
【請求項１０７】
　第一の方向で履物品中またはその上に備えられたモジュール固定要素に電子モジュール
を係合する工程であって、モジュールが電子装置を含む工程；および
　第一の方向が所定の作動方向に相当する場合、モジュールまたはモジュールの少なくと
も第一の機能を作動させる工程
を含む、電子モジュールを作動させる方法。
【請求項１０８】
　第一の方向が、所定の作動方向に相当する、請求項107記載の方法。
【請求項１０９】
　モジュール固定要素からモジュールを外す工程
をさらに含む、請求項108記載の方法。
【請求項１１０】
　外す工程が、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を作動停止させる、
請求項109記載の方法。
【請求項１１１】
　外す工程の後、第一の方向と異なる第二の方向で、モジュール固定要素にモジュールを
係合する工程
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をさらに含む、請求項110記載の方法。
【請求項１１２】
　第二の方向が所定の作動方向に相当しない場合、モジュールまたはモジュールの少なく
とも第一の機能が作動停止されたままになる、請求項111記載の方法。
【請求項１１３】
　外す工程の後、第一の方向と異なる第二の方向で、モジュール固定要素にモジュールを
係合する工程
をさらに含む、請求項109記載の方法。
【請求項１１４】
　第二の方向が所定の作動方向に相当しない場合、モジュールまたはモジュールの少なく
とも第一の機能が作動停止されるか、または作動停止されたままになる、請求項113記載
の方法。
【請求項１１５】
　第一の方向が所定の作動方向に相当する場合、係合する工程に応じて作動させる工程が
自動的に起こる、請求項107記載の方法。
【請求項１１６】
　第一の方向が所定の作動方向に相当しない場合、モジュールまたはモジュールの少なく
とも第一の機能を作動していない状態にするかまたはその状態を維持する工程
をさらに含む、請求項107記載の方法。
【請求項１１７】
　第一の方向が所定の作動方向に相当するか検出する工程であって、第一の方向が所定の
作動方向に対応するとして検出された場合に作動させる工程が起こり、第一の方向が所定
の作動方向に対応しないとして検出された場合に作動させる工程が起きない工程
をさらに含む、請求項107記載の方法。
【請求項１１８】
　第一の方向が所定の作動方向に相当しない場合、モジュールまたはモジュールの少なく
とも第一の機能を作動停止させるかまたは無効化する工程
をさらに含む、請求項107記載の方法。
【請求項１１９】
　履物品が、モジュールまたはモジュールの第一の機能を作動させるために、作動システ
ムの少なくとも第一の部分を含む、請求項107記載の方法。
【請求項１２０】
　モジュールが、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を作動させるため
に、作動システムの少なくとも第一の部分を含む、請求項107記載の方法。
【請求項１２１】
　作動させる工程が、磁気センサシステムからの出力に応じて行われる、請求項107記載
の方法。
【請求項１２２】
　モジュール固定要素が、電子モジュールを取り外し可能に受けるために、履物品上また
はその中に画定されたポケットを含む、請求項107記載の方法。
【請求項１２３】
　電子モジュールがモジュール固定要素に係合されている間、ワイヤレス様式でモジュー
ルにデータを入力する工程
をさらに含む、請求項107記載の方法。
【請求項１２４】
　データが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力される、請求項123記載の方
法。
【請求項１２５】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項107記載の方法。
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【請求項１２６】
　履物品中またはその上に備えられたモジュール固定要素に電子モジュールを係合させる
工程であって、モジュールが電子装置を含む工程；
　モジュールおよび履物品が互いとの動作について認可されるか検出する工程；および
　モジュールおよび履物品が互いとの動作について認可されると判断された場合、モジュ
ールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を作動させる工程
を含む、電子モジュールを作動させる方法。
【請求項１２７】
　判断することが、モジュールがモジュール固定要素に第一の方向で係合されているか判
断する工程を含む、請求項126記載の方法。
【請求項１２８】
　モジュールが第一の方向でモジュール固定要素に係合されていると判断された場合、作
動させる工程がモジュールを作動させるか、またはモジュールの第一の機能の作動を可能
にする、請求項127記載の方法。
【請求項１２９】
　モジュールが第一の方向以外の方向でモジュール固定要素に係合されていると判断され
た場合、モジュールまたはモジュール少なくとも第一の機能を作動停止させる工程
をさらに含む、請求項127記載の方法。
【請求項１３０】
　モジュールが第一の方向以外の方向でモジュール固定要素に係合されていると判断され
た場合、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を作動していない状態に維
持する工程
をさらに含む、請求項127記載の方法。
【請求項１３１】
　モジュールおよび履物品が互いとの動作について認可されないと判断された場合、モジ
ュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を作動停止させる工程
をさらに含む、請求項126記載の方法。
【請求項１３２】
　モジュールおよび履物品が互いとの動作について認可されないと判断された場合、モジ
ュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を作動していない状態に維持する工程
をさらに含む、請求項126記載の方法。
【請求項１３３】
　モジュールおよび履物品が互いとの動作について認可されるか判断するために、履物品
が、認証システムの少なくとも第一の部分を含む、請求項126記載の方法。
【請求項１３４】
　モジュールおよび履物品が互いとの動作について認可されるか判断するために、モジュ
ールが、認証システムの少なくとも第一の部分を含む、請求項126記載の方法。
【請求項１３５】
　判断することが、磁気センサシステムからの出力に応じて行われる、請求項126記載の
方法。
【請求項１３６】
　モジュール固定要素が、モジュールを取り外し可能に受けるために履物品上またはその
中に画定されたポケットを含む、請求項126記載の方法。
【請求項１３７】
　モジュールがモジュール固定要素に係合されている間、ワイヤレス様式でモジュールに
データを入力する工程
をさらに含む、請求項126記載の方法。
【請求項１３８】
　データが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力される、請求項137記載の方
法。
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【請求項１３９】
　判断することが、第一の磁石によって生成された磁界を検出する工程を含む、請求項12
6記載の方法。
【請求項１４０】
　判断することが、モジュール固定要素に係合されたモジュールに対して、第一の磁石が
所定の様式で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項139記載の方法。
【請求項１４１】
　判断することが、モジュール固定要素に係合されたモジュールに対して、第一の磁石が
所定の位置で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項139記載の方法。
【請求項１４２】
　判断することが、第一の磁石が少なくともしきい値の強度を有するか判断する工程を含
む、請求項139記載の方法。
【請求項１４３】
　判断することが、第一の磁石が所定の範囲内の強度を有するか判断する工程を含む、請
求項139記載の方法。
【請求項１４４】
　判断することが、複数の磁石によって生成された磁界を検出する工程を含む、請求項12
6記載の方法。
【請求項１４５】
　判断することが、モジュール固定要素に係合されているモジュールに対して、磁石が所
定の様式で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項144記載の方法。
【請求項１４６】
　判断することが、モジュール固定要素に係合されているモジュールに対して、磁石が所
定の位置で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項144記載の方法。
【請求項１４７】
　判断することが、複数の磁石が少なくとも所定の合成磁界強度を発生するかを判断する
工程を含む、請求項144記載の方法。
【請求項１４８】
　判断することが、複数の磁石が所定の範囲内の合成磁界強度を発生するかを判断する工
程を含む、請求項144記載の方法。
【請求項１４９】
　モジュール固定要素からモジュールを外す工程
をさらに含む、請求項126記載の方法。
【請求項１５０】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項126記載の方法。
【請求項１５１】
　靴底部材に上部部材を係合する工程；
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つの中またはその上に第一のモジュール固定要
素を備える工程であって、第一のモジュール固定要素が、履物品にモジュールを取り外し
可能に係合するための構造を含む工程；および
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つの中またはその上に第一の相互作用システム
を備える工程であって、第一の相互作用システムが動作すると、モジュールが第一のモジ
ュール固定要素に係合される場合に検知できる変化を少なくとも部分的に引き起こす工程
を含む、履物品を製造するための方法。
【請求項１５２】
　第一の相互作用システムの少なくとも一部分が、上部部材中またはその上に備えられる
、請求項151記載の方法。
【請求項１５３】
　第一の相互作用システムの少なくとも一部分が、靴底部材中またはその上に備えられる
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、請求項151記載の方法。
【請求項１５４】
　第一のモジュール固定要素が、上部部材上またはその中に少なくとも部分的に画定され
たポケット部材を含む、請求項151記載の方法。
【請求項１５５】
　第一のモジュール固定要素が、靴底部材上またはその中に少なくとも部分的に画定され
たポケット部材を含む、請求項151記載の方法。
【請求項１５６】
　第一相互作用システムが、第一のモジュール固定要素に隣接している上部部材または靴
底部材の少なくとも一つの中またはその上に備えられた第一の磁石を含む、請求項151記
載の方法。
【請求項１５７】
　第一の相互作用システムが、第一のモジュール固定要素に隣接している上部部材または
靴底部材の少なくとも一つに係合された第一の磁石、および第一モジュール固定要素に隣
接している上部部材または靴底部材の少なくとも一つに係合された第二の磁石を少なくと
も含む、請求項151記載の方法。
【請求項１５８】
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つの中またはその上に第二のモジュール固定要
素を備える工程であって、第二のモジュール固定要素が、第一のモジュール固定要素から
独立し、モジュールを履物品に取り外し可能に係合するための構造を含む工程
をさらに含む、請求項151記載の方法。
【請求項１５９】
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つの中またはその上に第二の相互作用システム
を備える工程であって、第二の相互作用システムが作動すると、モジュールが第二のモジ
ュール固定要素に係合されている場合にモジュールで検知できる変化を少なくとも部分的
に引き起こす工程
をさらに含む、請求項158記載の方法。
【請求項１６０】
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つの中またはその上に第三のモジュール固定要
素を備える工程であって、第三のモジュール固定要素が、第一および第二のモジュール固
定要素から独立し、モジュールを履物品に取り外し可能に係合するための構造を含む工程
；および
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つ中またはその上に第三の相互作用システムを
備える工程であって、第三の相互作用システムが作動すると、モジュールが第三のモジュ
ール固定要素に係合されている場合に、モジュールで検知できる変化を少なくとも部分的
に引き起こす工程
をさらに含む、請求項159記載の方法。
【請求項１６１】
　上部部材または靴底部材の少なくとも一つの中またはその上に第三のモジュール固定要
素を備える工程であって、第三のモジュール固定要素が、第一および第二のモジュール固
定要素から独立し、モジュールを履物品に取り外し可能に係合するための構造を含む工程
をさらに含む、請求項158記載の方法。
【請求項１６２】
　履物品中またはその上に備えられたモジュール固定要素にモジュールを係合する工程で
あって、モジュールが電子装置を含む工程；
　モジュールが係合されている履物品における位置または履物品のタイプを判断する工程
；および
　履物品の判断された位置またはタイプに基づいて、データ処理アルゴリズムを選択する
工程
を含む、データ処理アルゴリズム選択方法。
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【請求項１６３】
　履物品が、モジュール作動システムを含み、判断する工程が、モジュール作動システム
とモジュールとの間の相互作用の特性を検出する工程を含み、検出された特性が、モジュ
ールが係合されている履物のタイプを示す、請求項162記載の方法。
【請求項１６４】
　モジュール作動システムが磁石を含み、モジュールが磁気センサを含む、請求項163記
載の方法。
【請求項１６５】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定された磁石の強度に基
づいて示される、請求項164記載の方法。
【請求項１６６】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の方向に基づいて示さ
れる、請求項164記載の方法。
【請求項１６７】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の位置に基づいて示さ
れる、請求項164記載の方法。
【請求項１６８】
　モジュール作動システムが複数の磁石を含み、モジュールが少なくとも一つの磁気セン
サを含む、請求項163記載の方法。
【請求項１６９】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定された磁石の合成強度
に基づいて示される、請求項168記載の方法。
【請求項１７０】
　モジュール固定要素が、モジュールを受けるためのポケットを含む、請求項162記載の
方法。
【請求項１７１】
　モジュールがモジュール固定要素に配置されている間、ワイヤレス様式でモジュールに
データを入力する工程
をさらに含む、請求項162記載の方法。
【請求項１７２】
　データが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力される、請求項171記載の方
法。
【請求項１７３】
　判断する工程が、モジュールが第一の方向でモジュール固定要素に係合されているか判
断する工程を含む、請求項162記載の方法。
【請求項１７４】
　選択されたデータ処理アルゴリズムを開始する工程
をさらに含む、請求項162記載の方法。
【請求項１７５】
　判断する工程が、磁気センサシステムによって生成された出力に応じて行われる、請求
項162記載の方法。
【請求項１７６】
　磁気センサシステムの第一の部分が履物品に含まれ、磁気センサシステムの第二の部分
がモジュールに含まれる、請求項175記載の方法。
【請求項１７７】
　判断する工程が、第一の磁石によって生成された磁界を検出する工程を含む、請求項16
2記載の方法。
【請求項１７８】
　判断する工程が、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、第一の磁石が所定
の様式で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項177記載の方法。
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【請求項１７９】
　判断する工程が、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、第一の磁石が所定
の位置で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項177記載の方法。
【請求項１８０】
　判断する工程が、第一の磁石が少なくともしきい値の強度を有するか判断する工程を含
む、請求項177記載の方法。
【請求項１８１】
　判断する工程が、第一の磁石が所定の範囲内の強度を有するか判断する工程を含む、請
求項177記載の方法。
【請求項１８２】
　判断する工程が、複数の磁石によって生成された磁界を検出する工程を含む、請求項16
2記載の方法。
【請求項１８３】
　判断する工程が、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、磁石が所定の様式
で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項182記載の方法。
【請求項１８４】
　判断する工程が、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、磁石が所定の位置
で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項182記載の方法。
【請求項１８５】
　判断する工程が、複数の磁石が少なくとも所定の合成磁界強度を発生するかを判断する
工程を含む、請求項182記載の方法。
【請求項１８６】
　判断する工程が、複数の磁石が所定の範囲内の合成磁界強度を発生するかを判断する工
程を含む、請求項182記載の方法。
【請求項１８７】
　モジュール固定要素からモジュールを外す工程
をさらに含む、請求項162記載の方法。
【請求項１８８】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項162記載の方法。
【請求項１８９】
　モジュールの中またはその上に電子装置を備える工程；および
　ワイヤレス様式で行われ、検出要素が、運動能力と関連した物理的または生理学的特性
を検出していない間に行われる、モジュールに備えられたメモリにデータを入力する工程
を含む、データ取り扱い方法。
【請求項１９０】
　モジュールを履物品に係合する工程
をさらに含む、請求項189記載の方法。
【請求項１９１】
　入力する工程が、モジュールを磁気パルスに曝露する工程を含む、請求項190記載の方
法。
【請求項１９２】
　係合する工程に応じて、モジュールまたは検出要素を自動的に作動させる工程
をさらに含む、請求項190記載の方法。
【請求項１９３】
　履物品および検出要素が互いとの使用について認可されたか判断する工程
をさらに含む、請求項190記載の方法。
【請求項１９４】
　判断する工程が、係合する工程に応じて自動的に行われる、請求項193記載の方法。
【請求項１９５】
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　モジュールが、履物品に取り外し可能に係合される、請求項190記載の方法。
【請求項１９６】
　データを入力する工程が、モジュールを履物品に係合する工程に先立って行われる、請
求項190記載の方法。
【請求項１９７】
　データを入力する工程が、モジュールが履物品に係合された後に行われる、請求項190
記載の方法。
【請求項１９８】
　データを入力する工程が、モジュールが履物品に係合されている間に行われる、請求項
190記載の方法。
【請求項１９９】
　データを入力する工程が、モジュールを磁気パルスに曝露する工程を含む、請求項189
記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、一般に、一つまたは複数の電子モジュールを含む履物および履物システムに
関する。本発明の少なくともいくつかの実施例の局面は、モジュール作動／認証情報およ
び／またはデータ処理アルゴリズム選択情報を提供するために取り付けられる、モジュー
ルと履物品との間における物理的および／または他の相互作用(および／またはそのよう
な相互作用の欠如)を利用する(例えば、適切なセンサによる磁気源と光源との間の相互作
用)。本発明における追加の実施例の局面は、履物モジュールのためのデータ入力システ
ムを含む。
【背景技術】
【０００２】
背景
　履物技術が近年発展し、運動靴のような最新の履物の少なくともいくつかの例は、様々
な電子構成要素を含む場合がある。例えば、履物のアクティブな使用の特性に基づいて、
履物品によって提供された衝撃力減衰の程度を検出および制御するための装置を含む履物
システムが知られている。履物に関連した他の電子システムおよび特徴も知られている。
【発明の概要】
【０００３】
概要
　本発明の局面は、一つまたは複数の電子モジュールを含む履物品および／または履物シ
ステムに関する。これらの電子モジュールは、電子モジュールおよび装置が、RFID情報を
提供しあるいはRFIDシステムを作動させ、電子モジュールおよび装置が、データまたは情
報、例えば履物の使用に関連した様々な物理的および／または生理学的特性に関するデー
タまたは情報、モジュールを装備した履物を着用している間に起こる身体運動に関するデ
ータまたは情報を測定し、検出し、受信し、および／または送信し、データまたは情報お
よび／または同種のものを識別するような様々な機能を行なうための電子装置を含むこと
ができる。本発明の局面は、モジュールおよび／またはモジュールに含まれる、あるいは
モジュールに制御される電子装置(例えば、検出装置、送信装置、受信装置など)を作動お
よび／または作動停止させるための様々なシステムおよび方法に関する。本発明のさらな
る局面は、モジュールおよび履物品が互いとの使用について認可されるかどうかを確認す
るための様々なシステムおよび方法、モジュールへのデータ入力のためのシステムおよび
方法、および／またはモジュールによる使用のための自動データアルゴリズム選択のため
のシステムおよび方法に関する。本発明の少なくともいくつかの実施例において、モジュ
ールとそれが係合される履物品との間の物理的または他の相互作用(および／またはその
ような相互作用の欠如)を使用して、モジュールおよび／またはモジュールに含まれる電
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子装置を作動および／または作動停止させ、モジュールおよび履物が、互いとの使用につ
いて、および／または自動データアルゴリズム選択のために認可されるかどうかを確認す
ることができる。本発明の少なくともいくつかのより具体的な実施例によるシステムおよ
び方法は、光源と検知器および／または磁石と磁気検出システム、例えばホールセンサシ
ステムを利用して、任意でさらに独立したユーザ入力の必要なしに、様々なシステム(例
えば、モジュールまたはモジュールに含まれる電子装置)を作動させ、および／または様
々な方法を始める。本発明の少なくともいくつかの実施例は、物理的要素が現実にモジュ
ールの境界を横断するかまたはモジュールの中に入ることなく、相互作用あるいは相互作
用の変化を引き起こすように、モジュールと履物品とが係合される場合、モジュールと履
物品との間の磁気または光の相互作用、および／または相互作用の変化を利用する。この
特徴は、モジュールが堅固で、耐水性があり、および／または耐久性のある様式で構築さ
れることを可能にする。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本発明に関するより多くの完全な理解および少なくともいくつかの特徴ならびにその利
点は、次の記述および添付する図面を参照することにより得ることができる。図面を通し
て同様な参照番号は同様な特徴を示す。
【図１】本発明の実施例の履物、履物システム、測定モジュール、および方法を使用する
ことができる実施例環境を図示する。
【図２】例えば、本発明の少なくともいくつかの実施例の、身体活動あるいは運動または
同種のものに関連した物理的または生理学的特性あるいはデータを検出するために使用す
ることができる実施例の電子モジュールの概略ブロック図である。
【図３Ａ】本発明のいくつかの実施例による電子モジュールを含む履物システムの実施例
を図示する。
【図３Ｂ】本発明のいくつかの実施例による電子モジュールを含む履物システムの実施例
を図示する。
【図３Ｃ】本発明のいくつかの実施例による電子モジュールを含む履物システムの実施例
を図示する。
【図４】本発明のいくつかの実施例による電子モジュールを含む履物システムのための実
施例のオン／オフ特徴を図示する。
【図５】本発明のいくつかの実施例によるモジュール作動／認証特徴のさらなる実施例を
図示する。
【図６】本発明のいくつかの実施例で使用することができる、モジュール作動／認証特徴
、モジュール固定要素位置判断特徴、および／またはデータアルゴリズム選択特徴の実施
例を図示する。
【図７】本発明のいくつかの実施例で使用することができる、モジュール作動／認証特徴
、履物タイプまたはモジュール固定要素位置判断特徴、および／またはデータアルゴリズ
ム選択特徴の実施例を図示する。
【図８】本発明の少なくともいくつかの実施例で提供および使用することができる様々な
モジュールデータ入力特徴の実施例を図示する。
【図９】本発明の少なくともいくつかの実施例で提供および使用することができる様々な
モジュールデータ入力特徴の実施例を図示する。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
詳細な説明
　本発明の様々な実施例に関する次の記述において、本明細書の一部を形成する添付図面
が参照され、例示により本発明の局面が実行されうる様々な構造、態様、および実施例が
示される。本発明の範囲から外れることなしにその他の態様が利用され、構造および機能
の変更が行われても良いことを理解するべきである。
【０００６】
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I. 本発明の局面の一般的な記述
　本発明の局面は、一般に履物に関する。本発明の実施例およびそれを用いることができ
る実施例環境を一般的に図示する図1において示されるように、一つまたは複数の個々の
履物品100(運動靴のような)には、能力測定モジュール102、他の測定モジュール102、あ
るいは他の目的(例えばデータ送信、受信、RFID、無線または他のオーディオ／ビデオ送
受信等)のためのモジュール102のような電子モジュールを装備することができる。モジュ
ール102は、実行中に(例えば、競技イベント中または運動中もしくは他の実行中に)情報
を検出または収集し、履物ユーザまたはその他(例えば、送信装置、RFID装置など)へ情報
を提供し、および／または別の装置(例えば、履物衝撃減衰システムなど)を制御するため
の電子装置を含むことができる。任意の所望のまたは適切なタイプの情報を検出し、ユー
ザまたはその他に提供し、および／または使用または生成することができ、情報のタイプ
のより具体的な例は、ユーザ移動速度情報、移動距離情報、GPS情報、高度情報、ユーザ
の生理学的情報、GPS、速度、距離、生理学上の、あるいは他の情報から導き出した情報(
例えば、警告情報、ルート情報、地理情報など)、RFID生成情報、および同種のものを含
む。さらにまたはあるいは、モジュール102は、アクティブな衝撃減衰要素、表示装置、
データ受信装置などのように、履物品の一部として、ユーザの身体上で、ユーザによって
運ばれ、あるいは他の位置に存在する装置を含む他の装置または機能を制御するために、
および／または他の装置にデータを提供するために使用されてもよい。
【０００７】
　図1の実施例において示されるように、ユーザ104が動くと、履物100に装着されるかま
た含まれるモジュール102に備えられた装置は、運動および／または履物の使用に関連し
た一つまたは複数の物理的または生理学的特性(例えば、類似の速度および距離情報、GPS
情報、脈搏数、心拍数、および／または上に記述された情報のタイプ)を測定し、あるい
は他の所望の機能を実行する。望ましい場合、例えば、後の使用および／または分析のた
めに、データは、メモリ(例えば、モジュール102に含まれ、履物100に備えられ、周辺装
置などを備えたメモリ)に格納されることができ、および／または例えばモジュール102あ
るいは履物100の一部として任意に含まれる無線送信装置106を介してユーザまたは他のも
のへ送信されることができる。任意で、望ましい場合、モジュール102および／または履
物100は、ユーザ104または他のものにデータまたは他の情報を送信する前に集めたデータ
の処理を可能にするために、一つまたは複数のマイクロプロセッサあるいは他のデータ処
理能力を含むことができる。
【０００８】
　データまたは所望の情報を、本発明から外れることのない任意の所望の様式で、ユーザ
104または他のものに、例えば表示装置110を備えた無線受信器108に伝えることができる
。任意で、望ましい場合、モジュール102または履物100などによって送られたデータおよ
び／または情報のさらなる処理を可能にするために、表示装置110は、モジュール102また
は履物100によって送られた生データの最初の処理を可能にするマイクロプロセッサを装
備してもよい。より具体的な例として、表示装置110は、携帯型の、ユーザ持ち運び型装
置、例えば時計、PDA型装置、携帯電話、MP3または他のオーディオプレイヤー、頭部着用
型表示装置、ポケットベル型装置、ヘッドホンまたはイヤホンなどの様々な電子装置を含
むことができる。オーディオ装置、ビデオ装置、オーディオ／ビデオ装置、英数字表示装
置などのような任意のタイプの「表示装置」を設けることもできる。
【０００９】
　この一般的な実施例の一般的な記述および実施例の使用環境に照らして、本発明の様々
な実施例局面が以下により詳細に記述され、履物構造にモジュールを係合させることがで
きる様式、モジュールおよび／またはモジュールに含まれる電子装置を作動させることが
できる様式、特定のユーザによるあるいは特定の履物品によるモジュールの使用を認証す
ることができる様式、データ処理アルゴリズムを選択することができる様式、入力データ
を入力することができる様式、および／または同種のものに関する様々な実施例特徴を含
む。
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【００１０】
A. 自動オン／オフ
　本発明の一つの局面は、履物品の使用に関連したおよび／または履物品を着用している
間の着用者の動作に関連した物理的または生理学的情報のような情報を、履物着用者また
は他のものへ提供する装置等の電子装置を含む履物システムに関する。本発明の少なくと
もいくつかの実施例では、履物システムは、(a) モジュール固定要素を有する履物品、(b
) モジュール固定要素に移動可能に係合され、電子装置(例えば、履物品の使用に関連し
た少なくとも一つの物理的または生理学的特性(例えば、速度および／または距離情報、
ジャンプ高さ情報、GPS情報、高度情報、ユーザの物理的または生理学的情報、中底圧縮
情報、ゲーミング情報など)を検出する検出要素)を含むモジュール、および (c) モジュ
ールがモジュール固定要素と係合しているかを検出し、モジュールがモジュール固定要素
と係合されていると決定された場合、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機
能(例えば電子装置またはいくつかのの部分あるいはその機能など)を作動させる作動シス
テムを含む。望ましい場合、作動システムの少なくとも第一の部分は、履物品におよび／
または履物品の一部として含まれてもよく、作動システムの第二の部分は、モジュールに
および／またはモジュールの一部として含まれてもよい。作動システムの第一の部分は、
少なくとも履物品が使用される場合に、モジュール固定要素に隣接して配置されるような
位置に、履物品中あるいは履物品上に備えられる。
【００１１】
　本発明の少なくともいくつかの実施例において、モジュール、またはモジュールの少な
くともいくつかの機能は、例えば、モジュールがモジュール固定要素と係合するたびに、
および／またはモジュールがモジュール固定要素に配置されたとして検出されるたびに、
自動的に開始することができるかまたは有効化することができる。モジュールがモジュー
ル固定要素に配置されたかどうかに関する決定、および／またはモジュール固定要素にお
けるモジュールの検出は、本発明から外れることなく、任意の適切なまたは所望の様式で
行うことができる。例えば、作動システムは、モジュールがモジュール固定要素に含まれ
るかまたはモジュール固定要素と係合している場合に出力を発生させる磁気センサシステ
ム、圧電気システム、加速度計、光センサ、または同種のものを含むことができる。作動
システムがホールセンサシステムのような磁気センサを含む場合、磁気センサシステムの
第一の部分(例えば、磁石、磁気センサなど)は履物品に含まれてもよく、磁気センサシス
テムの第二の部分(例えば、磁気センサ、磁石など)は、モジュールに含まれてもよい。他
の実施例において、望ましい場合、モジュールまたは履物品のどちらかがソースおよびセ
ンサの両方を含むことができるが、その場合は、モジュールがモジュール固定要素と係合
している場合、検出された磁気特性の変化を検出することができる。そのようなシステム
の少なくともいくつかの例において、履物品およびモジュールの各々が、作動システムの
対応部分を含まない、および／または検出された特性において所定の変化を引き起こさな
い場合に、モジュールは作動しないおよび／または無効化され、および／またはモジュー
ルの様々な機能が作動しないおよび／または無効化される。モジュールおよび／またはモ
ジュールの機能の作動の実施例は、様々な図に関連して以下により詳細に記述される。
【００１２】
　モジュールは、本発明から外れることなく、任意の所望の様式において履物品に固定す
ることができ、例えば、モジュール固定要素は、本発明から外れることなく、任意の所望
の形状を取ることができる。本発明の少なくともいくつかの実施例において、モジュール
は、望ましい場合、例えば容易にそこから除去することができるように、着脱可能に履物
品に固定される。さらに幾つかの具体的な例として、モジュール固定要素は、モジュール
を受けることができる履物上部部材または靴底部材の中あるいはその上に形成されたポケ
ット、溝、またはスロットの形態をとってもよい。モジュールは、ひも、フラップ、フッ
クおよびループ型ファスナ、スナップ、フック、他の機械的ファスナ、保持壁または要素
、張力取り付け器具、つめ、ばね留めなどのような機械的接続部を介して、本発明から外
れることなく任意の所望の様式で履物に固定することもできる。
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【００１３】
　本発明の少なくともいくつかの実施例において、モジュール、またはモジュールの少な
くともいくつかの機能は、例えば、モジュールがモジュール固定要素に係合されるたびに
、および／またはモジュールがモジュール固定要素において検知されるたびに、自動的に
開始されるかまたは作動される。しかしながら、本発明の他の局面では、モジュールおよ
び／またはモジュールの様々な機能の作動は、いくぶん選択的なものでもよい。本発明の
別の実施例局面は、履物システムに関し、それは、(a) モジュール固定要素を有する履物
品、(b) モジュール固定要素に取り外し可能に係合され、電子装置(例えば、履物品の使
用に関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検出するセンサ要素)を含む
モジュール、および (c) モジュールがモジュール固定要素に第一の方向で係合している
かどうかを検出し、モジュールがモジュール固定要素と第一の方向で係合している場合、
モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能(例えば、電子装置または電子装置
のある部分または機能など)を作動させる作動システムを含む。そのようなシステムの少
なくともいくつかの例において、モジュールが、第一の方向以外(例えば、所定の作動方
向以外)の様式でモジュール固定要素と係合している場合、モジュールは、シャットダウ
ンされ、作動停止され、無効化され、始動せず、および／もしくは作動しない、ならびに
／またはモジュールの様々な機能は、シャットダウンされ、作動停止され、無効化され、
始動せず、および／もしくは作動しない。
【００１４】
　本発明におけるこれらの実施例の特徴は、モジュールおよび／またはモジュールの様々
な機能をオンおよびオフに切り替えるために使用することができる。さらにいくつかの具
体的な実施例として、モジュールがモジュール固定要素と第一の方向で係合すると、これ
によりモジュールを始動させ、および／またはモジュールの様々な機能を作動させる。モ
ジュール固定要素からモジュールを除去し、ひっくり返し、回転させる等行い、その後、
モジュール固定要素と再度係合することは、上に記述されたような、例えば磁気センサま
たは他の検知器システムによって検出することができ、これらの変化により、モジュール
が所定の作動方向以外の方向に位置付けられる。これらの方向変化に応じて(および／ま
たは、モジュールが所定の作動方向以外の方向でモジュール固定要素と係合するたびに)
、モジュールをシャットダウンすることができ、および／またはモジュールの様々な機能
をシャットダウン、無効化等することができる。この特徴は、電池寿命を延長するために
使用することができ、飛行機の運行、病院での使用、および／または他の送受信に影響さ
れやすい場所での使用などのために、モジュールの送受信能力(有する場合)をシャットダ
ウンする。そのようなシステムの少なくともいくつかの例において、履物品およびモジュ
ールが作動システムの対応する部分を各々含まない場合、ならびに／または予想される相
互作用および／もしくは相互作用の変化を引き起こさない場合、モジュールは、作動せず
および／もしくは無効化され、ならびに／またはモジュールの様々な機能は、作動せずお
よび／もしくは無効化される。
【００１５】
　上に記述されたように、作動システムの様々な部分は、履物品および／またはモジュー
ルに含まれることができ、および上に記述されたような様々なタイプの作動システム、セ
ンサシステム、固定要素、固定方法などを、本発明のこの局面から外れずに使用すること
ができる。履物システムの部分の様々な構成(例えば、モジュール、作動システム、検出
要素など)も、例えば、上に記述されたように、本発明のこの局面から外れずに使用する
ことができる。
【００１６】
　本発明のさらなる局面は、例えば運動中、練習中、競技実行中等に、例えば物理的また
は生理学的データを集めるための電子モジュールを作動させる方法に関する。そのような
方法は、例えば、(a) 履物品の中または履物品の上に備えられた(例えば、容易に着脱可
能な任意の様式で)モジュール固定要素と電子モジュールを係合する工程であって、モジ
ュールが電子装置(例えば、履物品の使用に関連した少なくとも一つの物理的生理学的特
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性を検出する検出要素)を含む工程、(b) 係合する工程に応じてモジュールまたはモジュ
ールの少なくとも第一の機能を自動的に作動させる工程を含むことができる。任意に、作
動手順の一部として、モジュールがモジュール固定要素に対して所定の作動方向に方向付
けられる場合かつその場合にのみ、作動が起こる。
【００１７】
　そのような方法において、上に記述されたように、作動システムは、モジュールおよび
／または履物品の少なくとも一つに関連することができ、この作動システムは、いつモジ
ュールがモジュール固定要素と係合されたか、および／またはモジュールが所定の作動方
向に方向付けられたかどうかを検出することができる。モジュールがモジュール固定要素
と係合した(任意で正しい作動方向に)場合に、モジュールを始動させおよび／もしくは作
動させることができ、ならびに／またはモジュールの様々な機能を、始動させおよび／も
しくは作動させることができる。モジュールが、モジュール固定要素と係合していない場
合、モジュール固定要素から除去される場合、および／または所定の作動方向以外の方向
に方向付けられる場合、モジュールを、停止させるかまたは作動停止させることができ、
および／またはモジュールの様々な機能は、停止させるかまたは作動停止させることがで
きる(任意で所定の時間が経過した後に)。
【００１８】
　本発明の実施例による方法において、作動システムの様々な部分は、履物品および／ま
たはモジュールに含まれてもよく、および上に記述されたような様々なタイプの作動シス
テム、センサシステム、固定要素、固定方法などが使用されてもよい。上に記述したよう
な要素の様々な構成(例えば、モジュール、作動システム、検出要素など)が、本発明によ
るこれらの実施例の方法の局面を実行するために使用されてもよい。望ましい場合、モジ
ュール固定要素に対してモジュールを再度方向付けること(例えば、ひっくり返す、回転
させるなど)が、本発明の少なくともいくつかの実施例の方法に従って、モジュールおよ
び／またはモジュールの様々な機能を停止させるかまたは作動停止させるために使用され
てもよい。
【００１９】
B. 認証特徴
　本発明のさらなる局面は、それに関連するモジュールが動作する前のいくつかのタイプ
の認証システムを含む履物システムに関する。そのような履物システムは、例えば、(a) 
モジュール固定要素を有する履物品、(b) モジュール固定要素に取り外し可能に係合し、
電子装置(例えば、履物品の使用に関連した少なくとも一つの物理的および生理学的特性
を検出する検出要素)を含むモジュール、および(c) 履物品およびモジュールが互いとの
動作について認可されるかどうかを判断する認証システムを含むことができる。電子装置
は、いったん作動すると、無線または他のオーディオ／ビデオ通信機能、データ送受信機
能、物理的および／または生理学的能力測定および／または監視機能(例えば、速度およ
び／または距離検出、ジャンプ高さ検出など)、GPS情報提供機能、高度測定機能、中底圧
縮検出機能、RFIDまたは他のデータ送受信機能などのような任意の所望の機能も行なうこ
とができる。
【００２０】
　任意のタイプの認証システムが、本発明から外れることなしに使用されてもよい。例え
ば、本発明のこの局面の少なくともいくつかの実施例において、認証システムの第一の部
分が履物品に含まれてもよく、認証システムの第二の部分がモジュールに含まれてもよい
。さらにいくつかの具体的な実施例として、上の段落に記述されたシステムの少なくとも
いくつかが、基本的な認証システムを提供するものとして考慮される場合がある。例えば
、上に記述されたように、いくつかの実施例のシステムは、モジュールが動作する前に、
および／またはモジュールが所望のデータを提供する前に、モジュールがモジュール固定
要素に対して所定の様式で方向付けられることを必要とする場合がある。他の実施例にお
いて、モジュールおよび履物品の両方は、作動システムの一部を含む必要があり、および
／またはモジュールおよび／またはその機能の少なくともいくつかが作動する前に、検出
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状態において所定の相互作用または変化を引き起こす。したがって、これらの実施例にお
いて、モジュールは、任意のタイプの靴では作用しないで、要求された作動(または認証)
システムの少なくとも一つの部分を含む靴でのみ作用し、および／または検出された相互
作用またはパラメータにおいて所定の相互作用および／または変化を引き起こす靴でのみ
作用する。
【００２１】
　磁気センサシステム、圧電気センサシステム、加速度計、光(または他の放射線)センサ
システム、および同種のもののような様々なタイプのシステムを、本発明から外れること
なく、認証のために使用することができる。より具体的な実施例として、光または磁気セ
ンサシステムの第一の部分(例えば、磁石、磁気センサ、光源、光検知器など)が履物品に
含まれてもよく、センサシステムの第二の部分(例えば、磁気センサ、磁石、光センサ、
光源など)がモジュールに含まれてもよく、これらの要素間の特定方向が、モジュールが
使用のために始動され、作動し、および／または有効化される前に必要とされてもよい。
さらなる実施例として、磁極方向、磁気センサの磁界強度(例えば、少なくとも限界強度
、所定の範囲内の強度など)、磁気センサの磁界方向、検知された光波長、検知された光
パターン、検知された光方向、検知された光強度、および同種のものは、モジュール／履
物の組み合わせを認証するために(例えば、履物品およびモジュールが互いとの動作につ
いて認可されるかどうか判断するために)必要な情報の一部として使用することができる
。さらなる実施例として、履物またはモジュールは複数の磁石または光源を含んでもよく
、全体の磁極方向情報、磁石位置情報、磁気センサの合成磁界強度(例えば、少なくとも
合成限界強度、所定の範囲内の合成強度など)、磁気センサの合成磁界方向、検知された
光波長、パターン、方向、輝度および同種のものは、モジュール／履物の組み合わせを認
証するために(例えば、履物品およびモジュールが互いとの動作について認可されるかど
うかを判断するために)必要な情報の一部として使用されてもよい。異なるタイプの認証
システムの組み合わせも、本発明から外れることなく使用することができる。
【００２２】
　本発明のさらなる局面は、(例えば運動中、練習中または競技中に、物理的もしくは生
理学的データを集めるために、または他の機能もしくは目的のために)認証ステップおよ
び／または認証システムの使用を含む電子モジュールを作動させるための方法に関する。
そのような方法は、例えば、(a) 履物品の中またはその上に備えられたモジュール固定要
素にモジュールを係合する工程であって、モジュールが電子装置(例えば、履物品の使用
に関連した、少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検出する検出要素)を含む工
程、(b) モジュールおよび履物品が互いとの動作について認可されるかどうか検出する工
程、および (c) モジュールおよび履物品が互いとの動作について認可されると判断され
た場合、モジュールまたはモジュールの少なくとも第一の機能を作動させる工程を含むこ
とができる。もちろん、モジュールおよび／またはモジュールの少なくともいくつかの機
能(例えば、電子装置またはその部分もしくは機能)は、モジュールおよび履物が互いとの
使用について認可されないことが分かった場合、および／またはモジュールがモジュール
固定要素から外される場合に、停止し、中断され、作動停止し、無効化され、作動停止状
態のままにされ、無効化状態のままにされることができる。例えば、上に記述されたよう
に、一つまたは複数の磁石および磁気センサの使用、相対的な磁石／センサ位置決めおよ
び方向、磁界強度、磁界方向、一つまたは複数の光源およびセンサ、光パターン、光度、
光波長などを含む認証情報を提供する様々な方法が、本発明のこの局面から外れることな
く使用されてもよい。
【００２３】
C. アルゴリズム選択特徴
　モジュールとその作動システムとの間の相互作用は、他の目的のために同様に使用され
てもよい。例えば、本発明の少なくともいくつかの実施例局面によれば、モジュールとそ
の作動システムとの間の相互作用に関する特徴は、どのデータ処理アルゴリズムを使用し
て、例えばモジュールに含まれたセンサによって検出され、集められ、および／または生
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成されたデータを処理するべきかに関する情報を提供するために使用することができる。
本発明のこれらの実施例局面の少なくともいくつかによる履物システムは、(a) モジュー
ル固定要素を含む履物品、(b) モジュール作動システムの少なくとも一部が履物品に含ま
れるモジュール作動システム、および (c) モジュール固定要素に取り外し可能に係合さ
れ、電子装置(例えば、履物品の使用に関連した少なくとも一つの物理的または生理学的
特性を検出する検出要素)を含み、モジュール作動システムとモジュールとの間の相互作
用が、モジュールにデータ処理アルゴリズム選択情報を提供するモジュールを含むことが
できる。
【００２４】
　モジュールとモジュール作動システムとの間の相互作用を変更または制御する様々なや
り方を、本発明から外れることなく使用することができる。例えば、モジュール作動シス
テムが、磁石ベースのセンサシステムを含む場合に、モジュールとモジュール作動システ
ムとの間の相互作用の局面は、例えば磁気センサ要素に対して一つまたは複数の磁石の方
向、位置、配置、磁界方向、および／または磁極方向を変更することによって、一つまた
は複数の磁石の強度を変更すること等によって、変更または制御することができる。異な
る方向、位置、配置、磁界方向磁極方向、強度、合成磁界強度、合成磁界方向、および同
種のものは、本発明の実施例によるシステムおよび方法によって検出され、データが収集
されるときに使用されるデータ処理アルゴリズムを制御および／または選択するための情
報として使用されることができる。もちろん、光源および光センサ(または他の検知シス
テム)が使用されてもよく、検知された光に関する様々な異なる特性(または他のパラメー
タ)が、使用するデータ処理アルゴリズムを制御および／または選択するために使用され
てもよい。様々な異なるセンサの組み合わせ、および／または検出されたパラメータが、
本発明から外れることなく使用されてもよい。
【００２５】
　より具体的な実施例として、異なる方向、位置、配置、磁界方向、磁極方向、磁気強度
、合成磁界強度、合成磁界方向、光位置、光波長、伝達／反射された光および／またはパ
ターン、光度、および同種のものは、本発明の実施例によるシステムおよび方法によって
検出され、例えば、モジュールが係合される履物のタイプ、モジュールが係合される履物
上の位置などを示すために使用することができる。その後、いったん履物のタイプまたは
履物上の位置の情報が判断されると、モジュールは、示された履物のタイプまたは履物上
の位置に関連した特定タイプのデータ処理アルゴリズムを開始するように制御される(例
えば、マイクロプロセッサによって)ことができる。
【００２６】
　よりさらに具体的な実施例として、ある特定のメーカーによって製造された各履物品は
、モジュール作動システムの一部として磁石または光源(または他の作動システム要素)を
含んでいてもよく、モジュールに含まれる異なるセンサを作動させることができ、異なる
データアルゴリズムを起動することができ、および／または異なる情報を、モジュールが
係合される靴のタイプに依存して、ユーザに提示することができる。ランニングシューズ
用に、この磁石を、N極を上にして配設することができ、または波長Aの光を靴に取り入れ
ることができ、この磁極方向または光波長がモジュールに含まれた適切なセンサによって
検出されたとき、モジュールを、GPSに基づいた速度、距離および高度情報を収集し、こ
の情報をユーザの表示装置に提供するように制御することができる。一方、ゴルフシュー
ズ用に、この同じメーカーは、磁石を配設して、S極を常時上向きにするか、または異な
る波長光源を使用することができる。したがって、この磁極方向または光波長が、モジュ
ールに含まれるセンサによって検出される場合に、モジュールは、単に歩数計に基づいた
速度および／または距離情報を生成し、この情報をユーザの表示装置に提供するように制
御されることができる。多様な異なる検出要素およびアルゴリズムは、本発明から外れる
ことなく、多様な異なる靴(例えばランニングシューズ、サイクリングシューズ、スケー
トボードシューズ、ウォーキングシューズ、ゴルフシューズ、バスケットボールシューズ
、電子ゲーム、ビデオゲームまたは他のゲームなどのために使用される履物等)と使用す
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るために作動させることができる。
【００２７】
　さらなるより具体的な実施例として、ある特定のメーカーによって製造された履物品は
、複数のモジュール固定要素(例えば後ろかかとにあるもの、舌革にあるもの、横側面に
あるもの、中央側面にあるもの、上部部材にあるもの、つま先領域にあるものなど)を含
んでいてもよい。異なる磁石構成(または光源もしくは他の作動システム要素)は、これら
の異なるモジュール固定要素の各々に関連させることができ、モジュールが装着される靴
上の位置をセンサが判断することが可能になる(例えば、かかと領域における二つの磁石
、上部領域で上向きのN極、舌革領域で上向きのS極、つま先領域における光源など)。任
意で、各モジュール固定要素は、それ自身の独立した関連する磁石、または他のモジュー
ル作動システムを有してもよく、あるいは、望ましい場合、(例えば、様々なモジュール
固定要素位置に対して距離、方向、強度を変えることによって)一つの作動システムの部
分が、一つ以上のモジュール固定要素によって共有されてもよい。異なるセンサがモジュ
ールにおいて作動することができ、異なるデータアルゴリズムを起動することができ、お
よび／またはどのモジュール固定要素がユーザによって利用されているとして検出される
かに依存して、異なる情報をユーザに提示することができる。
【００２８】
　本発明のこの局面の実施例は、例えば上に記述したようなデータアルゴリズム選択情報
能力を備えたシステムを使用して、作動のためのデータ処理アルゴリズムを選択するため
の方法にも関する。そのような方法は、例えば、(a) 履物品の中でまたはその上に備えら
れたモジュール固定要素に、モジュールが電子装置(例えば、履物品の使用に関連した少
なくとも一つの物理的または生理学的特性を検出する検出要素)を含むモジュールを係合
する工程、(b) 履物品における位置またはモジュールが係合している履物のタイプを判断
する工程、および (c) 履物品の判断された位置またはタイプに基づいて、データ処理ア
ルゴリズムを選択する工程および／または開始する工程を含むことができる。上に記述さ
れたように、モジュール作動システムの機能および／またはモジュールとの相互作用は、
磁石または光源方向、磁石または光源位置、磁石または光源配置、磁極方向、磁石または
光の強度または輝度等のような方法において、履物タイプまたはモジュール位置情報を提
供するために使用することができる。
【００２９】
D. データ入力特徴
　本発明のまたさらなる局面は、例えば履物品と使用するための、物理的または生理学的
能力監視システムに関連したモジュールのような電子モジュールのためのデータ入力特徴
に関する。そのようなシステムは、例えば、(a) ハウジング、(b) 例えば、運動能力に関
連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を示す情報(例えば、速度および／ま
たは距離情報、GPS情報、高度情報、ジャンプ高さ情報、ユーザの物理的または生理学的
情報、中底圧縮情報など)を検出するために、ハウジング内またはその上に少なくとも部
分的に備えられた検出要素または他の電子モジュール、および (c) ワイヤレス様式で入
力データを受信するために、ハウジング内またはその上に少なくとも部分的に備えられた
データ入力システムを含むことができる。任意で、ハウジング(およびその関連要素)は、
履物品と係合されてもよい(任意で、履物品と容易に取り外し可能なように)。データ入力
システムは、検出要素が運動能力に関連した物理的または生理学的特性を検出していない
場合のような、少なくとも電子モジュールが他の機能を行なっていない場合に(例えば、
履物品に装着された状態で、店頭位置で、レースまたはイベント登録位置で等)、入力デ
ータを受信することができる。データ入力システムは、本発明の少なくともいくつかの実
施例により、入力データを受信するために検出要素を利用してもよい。
【００３０】
　データ入力システムは、本発明から外れることなく、様々なやり方で入力データを受信
することができる。本発明の少なくともいくつかの実施例では、データ入力システムは、
少なくとも一部分において、例えば電磁パルス、光パルス等を介して、ワイヤレス様式で
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入力データを受信することができる。そのようなデータ入力システムは、例えば上に記述
した、任意の様々な履物システムおよび方法において備えることができる。
【００３１】
　本発明のこの局面のまたさらなる実施例は、例えば上に記述されたようなデータ入力シ
ステムを任意に使用する、データ取り扱い方法に関する。そのような方法は、例えば、(a
) モジュール中にまたはその上に検出要素または他の電子装置を備える工程(例えば、望
ましい場合、検出要素または他の電子装置は、運動能力に関連した少なくとも一つの物理
的または生理学的特性を検出するか、または他の所望の機能を行なってもよい)、および 
(b) ワイヤレス様式で行われる、モジュールに備えられたメモリにデータを入力する工程
を含むことができる。入力する工程は、例えば少なくとも検出要素が、運動能力に関連し
た物理的または生理学的特性を検出していない間に(例えば履物品に装着された状態で、
店頭位置で、レースまたはイベント登録位置で等)行うことができる。本発明の少なくと
もいくつかの実施例において、検出要素は、入力データを受信するために使用されてもよ
い。本発明のこの局面による方法の実施例は、さらに、履物品にモジュールを係合する(
任意で容易に取り外し可能な様式で)工程を含んでもよい。データを入力する工程は、履
物品にモジュールを係合する工程に先立って、モジュールが履物品に少なくとも一回係合
された後に、モジュールが履物品と係合されている間に、および／または任意の他の所望
のときに行うことができる。データは、上に記述されたように、電磁パルスまたは光パル
スを介して入力されてもよい。
【００３２】
E. 履物の局面
　本発明のまたさらなる局面は、上に記述したようなシステムおよび方法において使用す
るために、履物構造およびそのような履物構造を製造する方法に関する。本発明の少なく
ともいくつかの実施例による履物構造は、(a) 上部部材、(b) 上部部材と係合される靴底
部材、(c) 上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、少なくとも一つの電子装
置(例えば、履物品の使用に関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検出
するためのセンサ)を含むモジュールに取り外し可能に係合する構造を含む第一のモジュ
ール固定要素、および (d) 上部部材または靴底部材の少なくとも一つに含まれ、モジュ
ールが第一のモジュール固定要素に存在する場合に、モジュールと相互作用する相互作用
システムを含むことができる。相互作用システムの部分は、上部部材および／または靴底
部材のいずれかまたは両方に含まれてもよい。本発明の少なくともいくつかの実施例では
、相互作用システムの少なくとも一部分は、少なくとも履物品が使用される場合に、モジ
ュール固定要素に隣接して配置されるように備えられることができる。
【００３３】
　履物品に備えられた相互作用システムは、上に記述されたように、磁石および／または
磁気センサを含むことができる。もちろん、光または他の放射線源、光または放射線検知
器、圧力生成要素、圧力センサなどのような多様な他の作動システムが、本発明から外れ
ることなく使用されてもよい。本発明の少なくともいくつかの実施例において、相互作用
システムは、測定されたパラメータにおける変化を引き起こし、および／またはそうでな
ければ、モジュールがモジュール固定要素に装着される場合、モジュールに含まれるセン
サによって検知することができるいくつかの特性における相互作用または変化を引き起こ
す。
【００３４】
　さらに、上に記述されたように、履物品は、本発明から外れることなく、複数のモジュ
ール固定要素および／または複数の相互作用システムを含んでもよい。実施例として、個
別の履物品は、例えば、上部および／または靴底部材の両方における一つまたは複数の位
置、すなわち後ろのかかと、かかと側面、かかと中間、土踏まず側面、土踏まず中間、つ
ま先側面、およびつま先中間において、複数のモジュール固定要素を含むことができる。
さらにまたはあるいは、足の甲領域、舌革部材、および／または履物固定システム(例え
ば、靴ひも、ストラップ、バックルなど)は、本発明から外れることなく、一つまたは複
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数のモジュール固定要素および／またはモジュール相互作用システムを含むことができる
。望ましい場合、本発明から外れることなく、個々の個別モジュール固定要素が、別個の
相互作用システムを有してもよく、複数のモジュール固定要素が、単一の相互作用システ
ムおよび／またはその一部を共有してもよく、および／または個別の履物品上のすべての
モジュール固定要素が、単一の相互作用システムを共有してもよい。
【００３５】
　本発明のこの実施例の局面による方法は、履物品を製造するための方法を含む。そのよ
うな方法は、例えば、(a) 上部部材を靴底部材と係合する工程、(b) 上部部材または靴底
部材の少なくとも一つの中またはその上に、履物とモジュールを取り外し可能に係合する
ための構造を含む第一のモジュール固定要素を備える工程、および (c) 上部部材または
靴底部材の少なくとも一つの中またはその上に、モジュールが第一のモジュール固定要素
と係合された場合に、モジュールにおいて検知可能な変化を引き起こすために、少なくと
も部分的に動作する第一の相互作用システムを備える工程を含むことができる。望ましい
場合、さらなるモジュール固定要素および／または相互作用システムを、上に記述された
ように、備えてもよい。
【００３６】
II. 本発明の具体的な実施例
　本発明の局面を、上に概略的に記述してきたが、下記は、本発明によるシステムおよび
方法のより詳細で具体的な実施例を提供する。当業者は、もちろん、次の記述が本発明の
実施例の記述を構成し、いかなるやり方においても本発明を制限するものとして解釈され
るべきでないことを理解するべきである。 
【００３７】
　上に記述されたように、図1は、履物品100(運動靴のような)が能力測定または他の電子
モジュール102を装備している、本発明の実施例および使用の実施例環境を概略的に図示
する。モジュール102は、実行中(例えば練習、競技イベント中、または他の実行活動中)
に情報を検出または収集するための検知器または検出装置を含むことができる。さらに、
モジュール102または履物品100は、履物ユーザ104に情報を提供するために、処理性能お
よび／または転送性能を含んでもよい。任意の所望のタイプの情報を検出し、および／ま
たはユーザに提供することができる一方で、情報のタイプのより具体的な例は、ユーザ移
動速度情報、移動距離情報、GPS情報、高度情報、ジャンプ高さ情報、ユーザの物理的お
よび生理学的情報(例えば脈拍、心拍数、体温など)、GPS、速度、距離、または他の情報
から導き出した情報(例えば警告情報、経路情報、地理情報など)、ミッドソール圧縮情報
、および同種のものを含む。さらなる実施例として、センサではなく、電子モジュール10
2が、RFID、無線、オーディオ、ビデオまたは他のデータあるいは情報の送受信のような
任意の所望の機能を行なってもよい。データまたは情報は、時計、PDA型装置、携帯電話
、MP3または他のオーディオプレイヤー、ヘッド着用型表示装置、ポケットベル型装置な
どのような表示装置108を介してユーザに提示されてもよい。代わりにまたはさらに、望
ましい場合、検出された情報を使用して、ユーザ104に情報を提供するかまたは提供しな
いで、履物自体の特徴を変更または制御するために(例えば履物の衝撃減衰特性を制御す
るために)、または他の装置を変更あるいは制御することができる。
【００３８】
　図2は、図1に示されるような、履物品において使用するためのモジュール102に含まれ
ることができる実施例要素を概略的に図示する。図2は、一般に、モジュール102が電源を
含むことができることを示し、これは、バッテリー(例えば充電式電池など)、太陽電池、
および／または別のタイプの電源を構成することができる。電源は、より詳細に下に記述
されるように、本発明によるシステムおよび方法の少なくともいくつかの実施例における
作動または認証システムの一部として使用することができる磁気センサ要素のような、モ
ジュール102に含まれることができる他の要素を動作させるために、電力を供給する。も
ちろん、上に言及されたように、光源／センサ、圧電気要素などのような他のタイプの作
動および認証システムが、本発明から外れることなしで使用されてもよい。
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【００３９】
　磁気センサはマイクロプロセッサ装置に、信号情報、例えば磁界強度、磁界方向、磁極
方向、磁石位置、磁極方向、磁気源の数、磁気源の位置決めなどのような、磁気センサに
よって検出された磁界の一つまたは複数の特性を示す情報を提供してもよい。認証システ
ムの一部として使用された時、または作動システムの一部として使用された時でも、マイ
クロプロセッサは、磁気センサから入ってくるデータを処理し、モジュール102が履物品
に、および／または使用のために適したもしくは認可された位置もしくは方向に配置され
ているかどうを判断し、そうするのが適切な場合、電子装置(例えば検出装置など)を選択
的に動作させる(例えば、モジュール102が正しく方向付けられ、および／またはモジュー
ルが取り付けられた靴と使用するために認証されているとマイクロプロセッサが判断した
場合、電子装置を始動させ、動作を有効化し、および／またはそれを作動し、および／ま
たはモジュール102が使用のために正しく方向付けられていない、および／またはモジュ
ールが取り付けられた靴と使用するために認可されていないとマイクロプロセッサが判断
した場合、電子装置を停止させ、動作を無効化し、および／またはそれを作動させない)
。電子装置は、上で言及したように、履物品の使用に関連した物理的および生理学的デー
タのような、任意の所望のタイプの情報を検出および／または収集することができ、デー
タ、オーディオ信号、無線信号、ビデオ信号、送信RFID情報、または他のデータなどを送
受信することができる。任意で、少なくともいくつかの実施例のシステムにおいて、磁気
センサはさらに、本発明から外れることなく、物理的および／または生理学的データ検出
装置として機能しても(例えば、ホールセンサ要素として使用されても)よい。一つまたは
複数のLED 112 (または他のインジケータ)が、モジュール102が正しく方向付けられ、始
動し、データを受信し、シャットダウンするなどの場合を示すために使用されてもよい。
【００４０】
　データ、例えば電子装置によって収集されたデータを格納するために、メモリを備える
ことができる。収集された(および任意で格納された)データは、任意でマイクロプロセッ
サにおいてさらなる処理を受け、および／または、例えばモジュール102に備えられた送
信要素106を介して、上に記述されたような周辺表示装置に送信されてもよい。もちろん
、本発明から外れることなしで、有線およびワイヤレス接続を含む任意の所望のタイプの
データ送信機構およびシステムが使用されてもよい。さらにまたはあるいは、望ましい場
合、電子装置からのデータ、またはマイクロプロセッサによってさらに処理されたデータ
も、周辺装置へ送信することができ、そこで、情報がユーザに示される前にさらなる処理
が行われる(例えば、ユーザに情報を示す前に、任意で、他の外部データまたは情報とと
もに組み合わせるかまたは使用した後、表示装置110を、データをさらに処理する別個の
外部処理システムと共に動作させることができる)。任意の適したまたは所望の処理は、
本発明から外れることなしで、モジュール102、表示装置110、および／または他の所望の
処理装置(図示せず)で行うことができる。
【００４１】
　もちろん、図2は、靴と係合させるためのモジュール102に含むことができる装置の実施
例を示すだけである。電源、メモリ、マイクロプロセッサ、送信システム106、磁気セン
サの少なくとも一部および／または電子装置などのような、図2に示された一つまたは複
数の要素は、本発明から外れることなしで、モジュール102ではなく靴構造の一部として
含まれてもよい。様々な要素が、モジュール102以外の場所で提供される場合に、必要な
らば、モジュール102との電気的接続および／または他の通信を、ワイヤ、接触パッド、
接続ピン、ワイヤレス接続などを介するような任意の所望の様式で行うことができる。
【００４２】
　図3Aから3Cは、一般に、履物品100にモジュール102を固定する場合に含まれる実施例の
ステップを示す。従来例として、図3Aに示されるように、履物品100 (例えば運動靴また
は他の履物)は、例えば接着剤、セメント、融着または接着技術、機械的コネクタ、縫製
、とじ付け、および／または同種のものを介するような任意の従来の様式で互いに係合さ
れた上部部材120および靴底部材122を含むことができる。上部部材120は、足を受けるた
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めの開口124、および靴ひも、ストラップ、バックル、フックおよびループ型ファスナ、
フックファスナ、磁気ファスナなどのような固定機構(図3Aから3Cに図示せず)を含むこと
ができる。靴底部材122は、外底部分126(通常使用する場合に地面に接触する)、中底部分
128(通常衝撃反応力を減衰させるために使用される)、および靴の内底部分(通常図示され
ないユーザの足に係合する)を含むことができる。
【００４３】
　図3Aに示されるように、この実施例構造100において、中底128は、例えば履物品100の
使用に関連した物理的および生理学的特性を測定するための電子装置を含むモジュール、
例えば図2に図示されたタイプのモジュール102を受けて固定するためにその中に画定され
たモジュール固定要素130を有する。モジュール固定要素130は、本発明から外れることな
く、様々な異なるサイズ、形状、および形態をとることができる一方、この実施例構造10
0において、モジュール固定要素130は、図3Aにおいて矢印132によって図示されたように
、モジュール102を滑り込ませることができる中底128に画定されたスロットまたは開口の
形態をとる。
【００４４】
　いったん、モジュール固定要素130に挿入されると、図3Bに示されたように、モジュー
ル102は、必要ならば、さらに履物品100に固定されてもよい。例えば、図3Aおよび3Bに図
示されたように、開口130は、折り重ねて開口130を覆うことができ、それによってモジュ
ール102を開口130および履物品100に固定する、関連するカバーまたはフラップ構造134を
含むことができる。図3Aおよび3Bは、開口130上の適所にカバー134を保持するための、フ
ックおよびループ型ファスナの構造を概略的に図示しているが、本発明から外れることな
く、スナップ、バックル、フックおよびその他同種のもののような他のファスナ構造が使
用されてもよい。もちろん、保持壁および要素、つめ、糸状構造、ばね留め構造、機械的
接続部、接着剤、および同種のもののような、開口130内および／または靴100にモジュー
ル102を固定する他のやり方が、本発明から外れずに使用されてもよい。さらなる実施例
として、望ましい場合、メモリカードが挿入され、それぞれのスロット内に取り付けられ
るような様式で(例えばディジタルカメラなどにおいて)、直接(および任意で着脱可能に)
これらの部材を互いに取り付けるための構造が、開口130の中および／またはモジュール1
02上に備えられてもよい。任意で、望ましい場合、例えば、含まれる他の構造がモジュー
ル102を適所に適当に保持することができる場合、外部デブリおよび／または要素からの
モジュール102の保護が問題とならない場合等では、カバー部材134は必要ではない。図3C
は、この実施例構造における、(例えば内部にモジュール102を固定している開口130上に
カバー134を備える)履物100に完全に固定されたモジュール102を図示する。
【００４５】
　図3Cは、モジュール102および／またはモジュールの一つまたは複数の機能(例えば、物
理的および／または生理学的データの収集、検出、検知などの作動)を作動するために使
用することができる履物システムの実施例特徴をさらに示す。特に、図3Cは、履物構造の
一部分(この実施例構造における中底128)が、その中に磁石136を含むことができることを
示す。磁気センサを含むモジュール102(図2を参照)は、この実施例構造の開口130に挿入
され、磁気センサは、磁石136によって生成された磁界を検出し、その後、磁気センサは
、モジュール102に搭載されたマイクロプロセッサに信号を送ることができ、さらに信号
を送って、モジュールの様々な要素および／または機能を作動させる(例えば、検出装置
または他の電子モジュールを作動させ、送受信システム106を作動させ、RFIDシステムを
作動させる)ことができる。
【００４６】
　別の具体的な実施例として、望ましい場合、磁石136および磁気センサは、ホールセン
サシステムを構成することができ、モジュール102上の磁石136と、磁気センサとの間の相
対運動 (例えば、ユーザの足が、ステップ、ジャンプ中に、中底部材128を圧縮する場合
など)を検知することができる。ステップなどの間に、中底部材128の圧縮をそれぞれ検知
することによって、磁気センサ／磁石システムは、例えば歩数計型の速度、および／また
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は距離情報、ジャンプ高さ検出情報などを提供するために、物理的および／または生理学
的検出装置の少なくとも一部としても使用することができる。開口130へのモジュール102
の挿入中に、モジュール102上の磁気センサと磁石136との間の相対運動を検出して、例え
ばモジュール102に最初に電源を入れ、および／またはモジュール102の様々な機能を作動
させることもできる。この様式において、モジュール102は、履物品100に挿入されるとき
、ユーザによるさらなる操作の必要なしで、およびモジュール102と靴100との間の電気的
接触の必要なしで、自動的に直ちに電源を入れることができる。あるいは、望ましい場合
、最初にモジュール102をオンにする際に他のステップ(例えばオン／オフスイッチによる
ユーザの相互作用等)が含まれてもよい。
【００４７】
　図3Aから3Cにおいて示される実施例構造100は、他の可能で有用な機能を有する。例え
ば、磁石136および磁気センサは、自動シャットオフ要素として使用されてもよい。より
具体的には、磁気センサシステムが、所定期間に動きを検出しない (例えば、モジュール
102上の磁石136とセンサとの間で5分間、中底128の圧縮または他の相対運動がない)場合
、モジュール102 (または他の場所)に搭載されたマイクロプロセッサは、例えば電池寿命
を節約するために、モジュール102上の様々な装置および／または要素をシャットダウン
するための信号を送るようにプログラムされ適応されることができる。もちろん、履物の
使用が継続しているかどうかを判断するために、動き検知器、光検知器(例えば中断また
は動いている光ビームなど)、加速度計、および同種のもののような他のタイプの検知シ
ステムが使用されてもよい。望ましい場合、マイクロプロセッサを、モジュール102が開
口134から除去される場合、例えば磁気センサシステムまたは他の検知システムによって
生成された信号に応じて、モジュール102および／またはモジュール102の少なくともいく
つかの機能を自動的にシャットダウンするようにプログラムすることもできる。
【００４８】
　モジュール102および／またはモジュール102の様々な機能を始動および停止させる様々
なやり方を、本発明から外れることなしで提供することができる。例えば、図4に示され
るように、モジュール102は、例えば上に記述されるようなホールセンサシステムまたは
他の所望の「オン／オフ」スイッチング機構を使用して、履物の第一の方向(例えば、図4
の左手側に示されるような、この実施例における「上」方向)に方向付けられたとき、始
動および／または動作することができるように設計されてもよい。しかしながら、ユーザ
が開口130からモジュール102を除去する場合、および当初の「作動」方向に対応しない別
の様式で再度方向付ける(図4の右手側に示されるような、図示された実施例における「逆
さま」方向)場合、モジュール102またはその少なくともいくつかの機能を停止させるかま
たは停止させるマイクロプロセッサに表示器を設けてもよい。磁極方向の切り替え(例え
ば、N極が上からS極が上へ等)を使用して、モジュール102の再方向付けを示してもよい(
例えば、磁石がモジュール102などに搭載されている場合など)。モジュール102のそのよ
うな再方向付けに応じて、次に、マイクロプロセッサは、モジュール102またはその様々
な機能をシャットダウンするために適した信号を送ることができる(例えば、LED 112を、
モジュール102がシャットダウンしていることを示すために数回明滅させ、その後、シャ
ットダウン手順が完了したときに停止させてもよい)。この実施例特徴により、ユーザは
モジュール102のオン／オフ機能を容易かつ選択的に制御するための能力を与えられ、電
池寿命を保存するために、航空機の運行時、病院、および／または送信および／または受
信能力が禁止されているかまたは危険である可能性があるその他の場所で、例えば、ユー
ザがモジュール102 (または少なくともその送信および／または受信能力または他の能力)
を容易にシャットダウンすることが可能になる。もちろん、水平軸の周りを回したり、別
の開口またはモジュール固定要素に位置付けたりするなどのように、モジュール102を再
度方向付ける他のやり方が、本発明から外れることなしで使用されてもよい。この特徴は
、簡単で便利なオン／オフ切替を提供し、ユーザがモジュール102を紛失しないようにす
ること、および／または使用する必要がないかまたは所望しない場合に、その電源を止め
ることを支援する。代わりにまたはさらに、望ましい場合、オン／オフスイッチを含むこ
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と、電源がモジュール102から独立している場合(履物の一部として含まれる場合など)は
、その電源からモジュール102を分離すること(例えば電気的接続を外すこと)によって等
、モジュール102をオンおよびオフに切り替える他のやり方が、本発明から外れることな
しで使用されてもよい。
【００４９】
　図2～4に関連して、上に記述された様々な実施例の履物システムは、モジュール102お
よび／またはモジュール機能の少なくともいくつか(例えば、靴100の磁石136、およびモ
ジュール102の磁気センサまたはその逆)を作動させるために、履物品100およびモジュー
ル102の両方が相互作用要素を有する、および／またはいくつかの様式で相互作用する必
要があるので、基本的な「認証システム」を含むと考えることができる。もちろん、本発
明から外れることなしで、より高度な「認証システム」を備えることができる。例えば、
望ましい場合、モジュール102上の磁気センサは、磁石136によって作り出された磁界に関
するさらなる情報を検知するために使用することができ、モジュール102上のマイクロプ
ロセッサは、検知された磁界情報が所定のパラメータと一致する場合およびその場合のみ
、モジュール102および／またはその様々な機能を作動させるようにプログラムおよび適
応されることができる。例えば、磁気センサが磁界強度を測定または判断することができ
る場合、マイクロプロセッサは、磁界強度が所定のしきい値レベルに一致する場合および
その場合のみ、および／または磁界強度が所定の範囲以内にある場合およびその場合のみ
、モジュール102および／またはモジュール102の様々な機能を作動させるように適応させ
ることができる。このように、モジュール102は、任意のタイプの靴、すなわち中に単純
な磁石が装着された任意のタイプの靴と共に使用することができないのではなく、モジュ
ールのマイクロプロセッサにおいて設定された認証パラメータに一致する作動または認証
システムを有する靴のみと共に使用することができる。もちろん、磁界の方向付け、磁界
方向、磁極の方向付け、磁石の数、磁石とセンサとの間の距離などのような多様な他のパ
ラメータが、作動および／または認証目的のために、本発明から外れることなしで、しき
い値または所定の認可された範囲値に対して測定および比較されてもよい。さらにまたは
あるいは、光源および光検知器のような他のソースおよびセンサの組み合わせを、本発明
から外れずに使用することができ、「認証」情報は、例えば、光方向、光源の数、光源と
検知器との間の距離、光源波長、ブロック化されて伝達された光の所定のパターン(例え
ば、モジュールによってブロック化された、および／またはモジュールを通して伝達され
た光など)、入射光線角度などの形式にすることができる。望ましい場合、ソースおよび
センサの両方(例えば磁石、光、放射線など)が、モジュールまたは履物の一方に装着され
てもよく、例えば、モジュールと履物との間で提供された相互作用は、検出された情報を
(例えば光のブロック化により、光の伝達により、磁界のブロック化により、磁界の変更
により、光ビームの分割により、光ビーム方向の変更により)変更するために使用されて
もよい。
【００５０】
　任意で、望ましい場合、特定の履物品と共にモジュール102を作動させ、および／また
は使用を可能にするために必要な認証情報は、工場でメーカによって、販売場所で小売り
業者によって、家庭で消費者によって、および／または供給チェーンにおいておよび／ま
たは履物の使用中に任意の他の適したまたは所望の場所で、設定されてもよい。
【００５１】
　図5は、図3Aから3Cに関連して、上に記述した一般的な様式において、内部に装着され
たモジュールを有するモジュール固定要素502を備えた実施例の履物品500を図示する(も
ちろん任意の所望のタイプのモジュール固定要素およびモジュールが、本発明から外れる
ことなしで使用されてもよい)。この実施例構造500において、モジュール固定要素502の
まわりで二つの磁石504および506が配設され、これらの磁石504および506は、使用されて
いる間、モジュールをアクティブ状態に維持するために、モジュール(例えばモジュール
に含まれる電子装置または検出要素)を作動させるために、上記の様式で使用することが
できる。図5に示されるような二つの(または複数の)磁石504および506の使用はまた、例
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えば、磁気センサで測定された合成磁気強度、磁気センサで測定された合成磁界方向、磁
極方向、磁石の数、センサに対する磁石位置、互いに対する磁石位置、および同種のもの
を含む、認証の目的のために利用可能な情報に影響を与え、それを増加させることができ
る。さらに、モジュール(または別の適切な場所)に含まれるマイクロプロセッサは、モジ
ュールが、所定のしきい値、パラメータまたは特性に一致する磁石、または他の認証要素
(例えば光または他の放射線源など)を有するモジュール固定要素に配置されると、モジュ
ール(例えば能力検出要素(例えば履物の物理的性能および／または使用に関連した物理的
または生理学的な検出特性)またはモジュールに含まれる他の電子装置)の作動を制限する
ことができる。
【００５２】
　望ましい場合、認証の目的のために所定の範囲内に入るか、または所定のしきい値を満
たす一つまたは複数の特性を有するソースのどちらかまたは両方を任意で備えた、磁気源
と、光源を有するセンサ要素と、センサ要素との組み合わせのような、異なるタイプのセ
ンサおよび組み合わせられた様々な異なるタイプのセンサも、本発明から外れることなし
で、認証目的のために使用されることができる。上の記述から容易に理解することができ
るように、任意の数のセンサおよび異なるタイプのセンサの任意の組み合わせが、本発明
から外れることなしで、認証目的のために使用されてもよい。
【００５３】
　図6は、本発明の少なくともいくつかの実施例によるシステムおよび方法に含まれるこ
とができる、さらなる実施例の特徴を示す。図6は、履物品602と、例えば履物品602の使
用および／または履物品602を着用している間に行われた活動に関連した物理的および生
理学的特性を測定するための少なくとも一つのモジュール102とを含む履物システム600を
示す。この実施例構造600において、履物品602は、三つの独立したモジュール固定要素60
6(a)、606(b)および606(c)を含み、一つ(606(a))は、上に概略的に記述されたように履物
品602の靴底部材608のかかと領域に配置され、一つ(606(b))は、履物品602の上部部材610
の中またはその上に画定されたポケット要素として備えられ、および一つ(606(c))は、足
の甲領域において(例えば靴の舌靴に画定されたポケット部材として)備えられる。別個の
作動／認証システム610(a)、610(b)および610(c)は、この実施例構造600において、それ
ぞれ各モジュール固定要素606(a)、606(b)および606(c)のために備えられる。この図示す
る実施例において、作動／認証システム610(a)、610(b)および610(c)は、磁石の形態をと
る。しかし、上に記述されたように、様々な異なるタイプの作動システムおよび／または
認証システムが提供されてもよく、様々な異なるパラメータが、認証および作動の目的の
ために、本発明から外れることなしで、測定および使用されてもよい。
【００５４】
　もちろん、望ましい場合、単一の作動／認証システムが、本発明から外れることなしで
、所与の履物品上に、すべてのモジュール固定要素との使用のために提供されてもよい。
さらに別の選択肢として、望ましい場合、単一の履物品上における二つ以上のモジュール
固定要素が、本発明から外れることなしで、単一の作動／認証システムの少なくともいく
つかの部分を共有(例えば、磁石、光源などを共有する)してもよい。
【００５５】
　図6の実施例の履物システム600はまた、本発明の少なくともいくつかの実施例によって
利用可能にすることができる別の可能な特徴を例示することを助ける。より具体的には、
履物品602上に備えられた個別の作動／認証システムに、異なるタイプおよび／または特
性を備えることによって、マイクロプロセッサ(任意でモジュール102に搭載される)は、
作動／認証システムによって生成された信号に基づいて、履物品602上の、モジュール102
が配置される場所を判断することができる。例えば、モジュール固定要素606(a)に関連し
た磁石610(a)は、第一の強度、磁極方向、またはモジュール102 (および／またはモジュ
ール102に搭載された磁気センサ)に対する他の方向付け特徴を有することができる一方で
、モジュール固定要素606(b)に関連した磁石610(b)は、異なる強度、磁極方向、またはモ
ジュール102に対する他の方向付け特徴を有することができ、さらに、モジュール固定要
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素606(c)に関連した磁石610(c)は、異なる強度、磁極方向、またはモジュール102に対す
る他の方向付け特徴を有してもよい。磁気センサ(または他の作動／認証システム要素)が
、マイクロプロセッサにこのデータを提供する場合、マイクロプロセッサは、この情報を
使用して、モジュール102が配置される特定のモジュール固定要素(例えばこの実施例にお
いて606(a)、606(b)または606(c))を決定することができる。さらなる選択肢として、望
ましい場合、マイクロプロセッサは、履物品602内の、判断されたモジュール102位置(例
えばモジュール固定位置606(a)、606(b)または606(c))に基づいて、特定のタイプのセン
サを作動させ、および／またはそうでなければ特定のタイプのデータ処理アルゴリズムを
作動させ、開始させるかまたは利用することができる。
【００５６】
　さらに幾つかの具体的な実施例が続く。例えば、履物品602および／またはモジュール1
02は、長距離走またはジョギング中に使用するために、モジュール102がかかとをベース
としたモジュール固定要素606(a)内に配置されるように設計されるよう、設計およびプロ
グラムすることができる。このモジュール102の配置情報(例えば、検知された磁気強度、
磁極方向、光ビーム妨害、光ビーム波長などに基づいて判断することができる)を、マイ
クロプロセッサによって使用して、ユーザに(例えば、図1と関連して上に記述されたよう
に、ワイヤレス送信を介して表示装置に) GPSに基づく速度、距離、経過時間、高度、お
よび／または他の所望の情報を提供するために、例えば、GPSベースのセンサ要素および
／またはデータ処理アルゴリズムを作動させることができる。他方、履物品602および／
またはモジュール102は、モジュール102をウォーキングまたは類似したタイプの運動中(
例えば、ゴルフをプレーするとき、海岸に沿ってウォーキングするとき、トレッドミル上
でウォーキングするとき等)に使用するために、上部をベースとするモジュール固定要素6
06(b)に位置付けられるように設計およびプログラムされてもよく、および(例えば、磁気
強度、磁極方向、光ビーム妨害、光ビーム波長などに基づく)この配置情報をマイクロプ
ロセッサによって使用して、例えば、歩数計ベースの速度および距離監視システムおよび
／またはデータ処理アルゴリズムを作動させて、ユーザに、歩数計ベースの速度および距
離情報を(例えば図1に関連して上に記述されたような表示装置へワイヤレス送信を介して
)供給することができる。別の実施例として、履物品602および／またはモジュール102は
、バスケットボールをする場合に使用するために、モジュール102が足の甲または舌靴に
設置されたモジュール固定要素606(c)に位置付けられるように設計およびプログラムされ
てもよく、またこの配置情報(例えば磁気強度、磁極方向、光ビーム妨害、光ビーム波長
などに基づく)を、マイクロプロセッサによて使用して、例えば、ジャンプ高さセンサ、
スピードセンサ、加速度計などを作動させるために、および／またはこの種のデータを検
出し、および／または(例えばワイヤレス送信などを介して)ユーザにデータを送るための
データ処理アルゴリズムを作動させてもよい。
【００５７】
　任意で、望ましい場合、ユーザは、本発明から外れることなしで、複数のモジュール固
定要素(例えば606(a)、606(b)など)に同時に装着された複数のモジュール102を備えた履
物品600を使用することができる。そのような状況において、物理的および／または生理
学的データ、もしくは検出装置またはモジュール102に関連した他の電子装置によって生
成された他のデータを、任意の所望の様式で、一つまたは複数の表示装置上で例えば各モ
ジュール102専用の個別の表示装置上や、所定の(例えば繰り返され変化するような)アル
ゴリズムに応じた単一の表示装置上、ユーザの要求に基づいた単一の表示装置上などで、
ユーザに示すことができる。あるいは、望ましい場合、履物システム600は、所定の時間
に一つのモジュール102だけの動作を可能にするように設計されてもよい。
【００５８】
　選択的な電子装置作動および／またはデータ処理アルゴリズム選択の上記の原理は、異
なるタイプの履物を含むような場合に拡大適用することができる。図7Aおよび7Bは、一例
を図示する。履物メーカは、一つのタイプの作動／認証特性を備えた一つのタイプの靴、
および異なる作動／認証特性を備えた別のタイプの靴を設計することができる。より具体
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的な実施例として、履物メーカは、すべてのランニングシューズまたはジョギングシュー
ズ700が、(図7Aに示されたような)一つの強度を有する単一の磁石702 (または他の作動シ
ステム)を備えた作動／認証システムを有するように、およびすべてのゴルフシューズま
たはウォーキングシューズ750が、(図7Bに示されたような)異なる合成強度を有する複数
の磁石752 (または他の作動システム)を備えた作動／認証システムを有するように製造す
ることができる。第三のタイプの靴(例えばバスケットボール靴)は、第三の独立した一連
の磁気または他の特性を有してもよい。もちろん、上に記述された様々な実施例の特性の
いずれかが、本発明から外れることなしで、作動および／または認証目的のために、およ
び／または他のものから一つのモジュール固定要素位置を識別するために使用されてもよ
い(例えば磁界方向、磁極方向、センサに対する磁石位置、磁石の数、互いに対する磁石
位置、光波長、光度、光源の数、光伝達／反射／ブロック化特性、光ビーム分割特性、入
射光角度など)。このように、単に靴の内にモジュール102を位置付けることによって、モ
ジュール102 (または他の適切な位置)に搭載されたセンサは、作動／認証情報および特性
を検知することができ、マイクロプロセッサに情報を与えることができ、モジュール102
に関連したマイクロプロセッサは、モジュール102が装着される履物のタイプ(例えば図示
する実施例において700または750)を判断することができる。履物のタイプの情報を、マ
イクロプロセッサによって使用して、例えば図6に関連して上に記述された様式で、どの
センサまたは他の電子装置を作動させるべきかを判断し、および／またはそうでなければ
どのデータ処理アルゴリズムを実行するかを判断することもできる(例えば、ランニング
シューズで使用するためのGPSベースの情報を収集して示すこと、ゴルフシューズまたは
ウォーキングシューズ用の歩数計ベースの情報を収集して示すこと、バスケットボール靴
用のジャンプ高さ情報を収集して示すこと、サイクリング方向の情報を収集して示すこと
、アルゴリズムを実行し、ゲーム(例えばコンピュータゲーム、ビデオゲーム、身体活動
を含むゲームなど)のための情報を収集して示すことなど)。
【００５９】
　上に記述されたようなモジュール102は、本発明から外れることなしで(例えば従来の有
線またはワイヤレス接続を介して、もしあれば送受信機構106などを介して)入力データを
受信することもできる。例えば、モジュール102は、使用のために認可される作動および
／または検出特性を示す情報、所有者情報、トラックまたはルート情報などを受信するこ
とができる。望ましい場合、磁気センサ、光センサまたはモジュール102に搭載された、
作動および／または認証目的のための入力を受信するために使用される他の装置は、入力
データを受信するためにも(例えばマイクロプロセッサにおけるストレージ、モジュール1
02に搭載されたメモリ、外部メモリなどとして)使用することもできる。図8は、モジュー
ル102に(例えばマイクロプロセッサレジスタ、オンボードメモリなどに)データを入力す
るための実施例システム800の一例を図示する。システム800は、電磁石802と、電磁石802
にパルスをオンおよびオフさせる(またはそうでなければパルス信号を送り、例えばコイ
ル状ワイヤおよびAC電源が使用される場合がある)装置804を含む。電磁パルスは(装置804
によって制御され)、モジュール102に搭載された磁気センサを作動させるために使用する
ことができ(図2を参照)、これにより出力を生成させる(実施例の作動および認証手順に関
連して上に記述されたように)。パルスを制御することによって(例えばパルスなし＝論理
回路0ビット、1パルス＝論理回路1ビット)、マイクロプロセッサ、メモリまたはモジュー
ルに搭載された他の装置において、入力データを生成および格納することができる。例え
ば、販売場所で(例えば購入者の識別情報、作動／認証情報、および／または他の所望の
情報を入力するために)、競技会場で(例えばスポーツ選手の識別情報、トラックまたはル
ート情報などを入力するために)、その他の使用ポイント(例えばスポーツジム、スパなど
)または同種の場所で、この特徴を使用することができる。もちろん、任意の所望のデー
タを、このように入力することができ、本発明から外れることなしで、任意のタイプの入
力源情報を使用することができる(例えば磁気源／センサではなく、パルス光源および検
知器等)。
【００６０】
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　さらに、図9に図示されるように、入力データを受信する場合に、履物品からモジュー
ル102を除去する必要がない。むしろ、図9に示されるように、モジュール102は、履物品9
00と係合され、図8に関連して上に記述された様式において入力データを受信することが
できる。実際、履物品900は、入力データが電磁石802 (またはパルス光源などのような他
の入力データ源)を介して送信されるときに、ユーザ902の足に実際に固定することができ
る。例えば、競技会場またはその他の使用ポイントで、そのようなシステムは、データを
入力したり、および／またはモジュールのいくつかの機能を開始させるために特に役立つ
かもしれない。
【００６１】
　図8および9に関連して上に記述したデータ入力システムおよび方法は、モジュール102
にデータを入力するために、外部パルス磁石、光源、または他のソースを使用することを
可能にする。この構成の一つの利点は、データ入力システムが接点なしで、無線またはIR
入力を使用せず、簡単に使用できることである。望ましい場合、モジュールを防水、密封
になるように製造することもできる。
【００６２】
　この様式でのデータ入力は、多様な目的のために使用することができる。一つの実施例
は、ユーザ(またはその他)が様々な動作「モード」を設定することを可能にする。一つの
実施例として、メモリにデータを実際に入力するのではなく、入力されてくる信号の周波
数を検知して、様々な動作モードを設定するために使用してもよい(例えば10Hzの入力で
モジュール102が「テスト」モードになり、20Hzでは「サイレント」すなわち作動停止モ
ードになり、60Hzではフル動作モードになるなど(例えば表示装置などへのFMデータ送信
を含む))。「テストモード」は、例えば工場で、モジュールを試験ジグに位置付け、その
機能(例えば所定の試験バッテリーの実行、診断の実行など)を試験することに使用されて
もよい。小売店または他の店頭位置で、モジュール102は、図8または9に示されるように
電磁石上に位置付けられ、購入後最初の使用時に作動させる(例えば、以前の、店内での
試着からモジュールおよび／または履物に記録された任意の使用量を消去にする)ための
データ入力(例えば特定の所定の周波数)を与えられてもよい。競技大会で、靴着用者は、
電磁マット(または他の適切なデータ入力装置)上に立つことができ、入力データを使用し
て、モジュールを特別な「報酬モード」にすることができる(例えば、合計走行使用量、
その靴での合計マイル、一定期間にわたる合計マイルなどを示すデータを送るよう促し、
着用者は、予め指定した目標に対する自分の上達度をチェックし、記録された使用量デー
タに基づいて賞または報酬を受けることができる)。これらのデータ入力方法は、例えば
特定の使用のために、モジュールを、歩数計モード、走行モード、バスケットボールジャ
ンプ高さ記録モード、ゲームモードなどのような様々な所定のまたは特定の動作モードに
するために使用することもできる。
【００６３】
　もちろん、多様な異なるモードおよび用途を、例えば、図8および9に関連して記述した
システムおよび方法によって導入された入力に基づいて利用することができる。より具体
的な実施例として、(a)「機内スリープモード」を作動させる(例えば、例えば空港内の売
店または他の場所などで、データ送信および／または受信能を停止させて、モジュールを
所定の期間停止させる)、(b) ビデオゲーム、運動系ゲーム、または他のゲームまたは報
酬プログラムなどで使用されたデータを収集するためにモジュールを「ゲームモード」に
する、(c) 新しいファームウェアまたはソフトウェアをアップグレードするかまたは追加
する、(d) 例えば配送中または他の不使用期間中、「電力セーブモード」を作動させる(
例えば貯蔵寿命などを節約する非常に低い電力)、(e) システム(例えば使用量カウンタ、
ゲームスコアなど)をリセットする、(f) モジュールに、合計使用量、識別情報、他の所
望の情報などを出力するように合図する、(g) 個人情報(例えば名前、住所、身長、体重
、ランニングクラブ、識別情報など)を入力するなどのために、このようなシステムおよ
び方法を使用することができる。例えば、図8および／または9に示されたようなデータ入
力システムを、以下のように使用することもできる。(a)「低電力」または「アンチデッ
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ド（anti-dead）」動作オーバーライドを提供する(ユーザが電池寿命のすべてを使い果た
しても、格納された情報を獲得することを可能にする)、(b) メーカーで「パートナコー
ド」をセットアップする(例えばモジュールで使用するための認証パラメータを設定する)
、(c) データスクランブルおよび暗号化のために使用されるセキュリティキーを変更する
(所望であるかまたはシステムによって使用される場合)、(d) モジュールの検知器が、速
度連続体のより遅い端でより良好に動作することを可能にし、高速または広範囲の速度に
わたって使用するように設定を最適化しないように使用することができる性能限界を設定
する(例えばモジュールが典型的に低速などで使用されることを示す)、(e) ユーザのモデ
ルと一致するように、受信器(例えばラジオ、ビデオ、MP3プレーヤー、他の表示装置)の
性能特性を変更する、(f) 出力を変更するかまたは変更周波数を示す(例えば1秒に二度、
10秒ごとに一度、示された情報をアップデートまたは変更する)、(g) 動作／電力消費量
モードを変更する(例えば、非常に精度が高い歩数計算または他のデータを提供するため
の高い電力、数ステップまたはデータポイントを見落とすかもしれないが(例えば単に歩
き回る場合に適切)、電池寿命を節約する低い電力)。広範囲の他の入力が、本発明から外
れることなしで、例えば図8および9に示されたシステムを介して、モジュール102に提供
されてもよい。
【００６４】
　上記の実施例の多くは、履物に装着された装置と、作動／認証目的のためのモジュール
に含まれた装置との間の相互作用について記述している。しかし、本発明は、このような
特定の環境または構造的構成において使用することに制限されていない。むしろ、望まし
い場合、ソースおよびセンサの両方は、ただ一つの部材に含まれてもよく(例えば両方が
モジュール上にあるか、または両方が履物品上にある)、モジュールが履物品に挿入され
る場合(そうでなければ履物品と相互作用する場合)に検出されたパラメータの変化は、作
動／認証目的のために使用することができる。例えば、検出された磁界の変化、光ビーム
妨害、光ビーム伝達／反射／角度／光度の変化、物理的相互作用および同種のものは、モ
ジュールが履物品に挿入されるときに引き起こされ、そのような変化は、本発明から外れ
ることなしで、作動／認証目的のために使用することができる。
【００６５】
　上記の記述の多くは、磁石または他のソースが靴に配置され、作動および／または認証
目的のために使用されるシステムにも関する。これは、本発明のすべての実施例における
要件ではない。例えば、望ましい場合、磁石または他の作動／認証イニシエータソースは
、時計、指輪、腕輪、衣類、周辺機器、および同種のもののような別の装置に備えられて
もよく、そのとき、この他の装置を、靴のモジュールの近くに移動させて、(例えば作動
および／または認証目的のために)データ収集を開始させてもよい。
【００６６】
　さらに、上の記述および特定の実施例の多くは、履物品に装着された電子モジュールが
、履物品の使用に関する情報(例えば履物品の使用と関連した物理的または生理学的デー
タ)を提供するかまたは検出するシステムおよび方法に関する。本発明の少なくともいく
つかの実施例によるシステムおよび方法は、これらのタイプの用途に制限されていない。
むしろ、望ましい場合、電子装置またはモジュールは、本発明から外れることなしで、任
意の所望の機能を行ない、および／または任意のタイプのデータを検出または監視するこ
とができる。可能な機能または動作のさらなる実施例は、データ送信および／または受信
機能、RFID送信および／または受信機能の有効化、他のシステムの制御(例えばアクティ
ブ衝撃減衰制御システムなど)、無線または他のオーディオ／ビデオ送信装置または表示
装置の制御などを含むが、これに制限されない。
【００６７】
III. 結論
　本発明を実施する、現在好ましい形態を含む特定の実施例に関連して、本発明を記述し
てきたが、当業者においては、上に記述されたシステムおよび方法の多数の変形および置
換が存在することが理解されよう。例えば、本発明の様々な局面が、異なる組み合わせに
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おいて使用されてもよく、本発明の局面の様々な異なる下位の組み合わせが、本発明から
外れることなしで、単一のシステムまたは方法においてともに使用されてもよい。上に記
述された様々な方法ステップは、変更され、順序変更され、省略されてもよく、および／
またはさらなるステップが、本発明から外れることなしで加えられてもよい。したがって
、本発明は、添付された請求項において述べられているように広く解釈されるべきである
。

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図３Ｃ】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】

【手続補正書】
【提出日】平成26年1月17日(2014.1.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　履物品中またはその上に備えられたモジュール固定要素にモジュールを係合する工程で
あって、モジュールが電子装置を含む工程；
　モジュールが係合されている履物品における位置または履物品のタイプを判断する工程
；および
　履物品の判断された位置またはタイプに基づいて、データ処理アルゴリズムを選択する
工程
を含む、データ処理アルゴリズム選択方法。
【請求項２】
　履物品が、モジュール作動システムを含み、判断する工程が、モジュール作動システム
とモジュールとの間の相互作用の特性を検出する工程を含み、検出された特性が、モジュ
ールが係合されている履物のタイプを示す、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　モジュール作動システムが磁石を含み、モジュールが磁気センサを含む、請求項２記載
の方法。
【請求項４】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定された磁石の強度に基
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づいて示される、請求項３記載の方法。
【請求項５】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の方向に基づいて示さ
れる、請求項３記載の方法。
【請求項６】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサに対する磁石の位置に基づいて示さ
れる、請求項３記載の方法。
【請求項７】
　モジュール作動システムが複数の磁石を含み、モジュールが少なくとも一つの磁気セン
サを含む、請求項２記載の方法。
【請求項８】
　履物のタイプが、少なくとも部分的に、磁気センサによって測定された磁石の合成強度
に基づいて示される、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　モジュール固定要素が、モジュールを受けるためのポケットを含む、請求項１記載の方
法。
【請求項１０】
　モジュールがモジュール固定要素に配置されている間、ワイヤレス様式でモジュールに
データを入力する工程
をさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　データが、少なくとも部分的に、磁気パルスを介して入力される、請求項１０記載の方
法。
【請求項１２】
　判断する工程が、モジュールが第一の方向でモジュール固定要素に係合されているか判
断する工程を含む、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　選択されたデータ処理アルゴリズムを開始する工程
をさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　判断する工程が、磁気センサシステムによって生成された出力に応じて行われる、請求
項１記載の方法。
【請求項１５】
　磁気センサシステムの第一の部分が履物品に含まれ、磁気センサシステムの第二の部分
がモジュールに含まれる、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　判断する工程が、第一の磁石によって生成された磁界を検出する工程を含む、請求項１
記載の方法。
【請求項１７】
　判断する工程が、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、第一の磁石が所定
の様式で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　判断する工程が、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、第一の磁石が所定
の位置で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
　判断する工程が、第一の磁石が少なくともしきい値の強度を有するか判断する工程を含
む、請求項１６記載の方法。
【請求項２０】
　判断する工程が、第一の磁石が所定の範囲内の強度を有するか判断する工程を含む、請
求項１６記載の方法。
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【請求項２１】
　判断する工程が、複数の磁石によって生成された磁界を検出する工程を含む、請求項１
記載の方法。
【請求項２２】
　判断する工程が、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、磁石が所定の様式
で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　判断する工程が、モジュール固定要素におけるモジュールに対して、磁石が所定の位置
で方向付けられているか判断する工程を含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２４】
　判断する工程が、複数の磁石が少なくとも所定の合成磁界強度を発生するかを判断する
工程を含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２５】
　判断する工程が、複数の磁石が所定の範囲内の合成磁界強度を発生するかを判断する工
程を含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２６】
　モジュール固定要素からモジュールを外す工程
をさらに含む、請求項１記載の方法。
【請求項２７】
　電子装置が、履物品の使用と関連した少なくとも一つの物理的または生理学的特性を検
出する検出要素を含む、請求項１記載の方法。
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